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PROGRAM STUDIOW

WYDZIAL: Chemiczny

KIERUNEK STUDIOW: InZzynieria chemiczna i procesowa

Przyporzadkowany do dyscypliny:

D1|inzynieria chemiczna

POZIOM KSZTALCENIA: studia drugiego stopnia (4 sem. magisterskie)
FORMA STUDIOW: stacjonarna

PROFIL: og6lnoakademicki

JEZYK PROWADZENIA STUDIOW: jezyk polski

Zawarto$¢:

1. Zaktadane efekty uczenia si¢ — zat. nr 1 do programu studiow
2. Opis programu studiow — zal. nr 2 do programu studiow
3. Plan studiow — zat. nr 3 do programu studiéw

4. Karty przedmiotow — zal. nr 4 do programu studiow

Obowiazuje od roku akademickiego 2019/2020 ze zmianami wprowadzonymi Uchwata nr 292/24/2020-2024 Senatu Politechniki Wroctawskiej z dnia
7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwaty nr 743/32/2016-2020 Senatu PWr z dnia 16 maja 2019 1.




Zalacznik nr 2 do ZW 13/2019
Zalacznik nr 1 do programu studiéow

ZAKLADANE EFEKTY UCZENIA SIE

WYDZIAL. CHEMICZNY

Kierunek studiow: Inzynieria chemiczna i procesowa
Poziom studiow: studia drugiego stopnia

Profil: ogélnoakademicki

Umiejscowienie Kierunku
Dziedzina nauki: nauki inzynieryjno-techniczne
Dyscyplina: inzynieria chemiczna

Objasnienie oznaczen:
Odniesienie do charakterystyk PRK
P7U — charakterystyki uniwersalne odpowiadajace ksztalceniu na studiach drugiego stopnia - 7 poziom PRK
P7S — charakterystyki drugiego stopnia odpowiadajace ksztalceniu na studiach drugiego stopnia studiow - 7 poziom PRK
po znaku podkreslenia:
W — wiedza (rozszerzenie: G = glebia i zakres, K = kontekst),
U — umiejetnosci (rozszerzenie: W = wykorzystanie wiedzy, K = komunikowanie si¢, O = organizacja pracy, U = uczenie si¢),
K — kompetencje spoleczne (rozszerzenie: K = krytyczna ocena, O = odpowiedzialnos¢, R = rola zawodowa),
INZ — efekty uczenia sie prowadzace do uzyskania kompetencji inzynierskich.
Symbole kierunkowych efektéw uczenia si¢ na II stopniu studiéw dla kierunku Inzynieria chemiczna i procesowa (ic)
przed znakiem podkre$lenia:
K — kierunkowe efekty ksztalcenia,
2 — drugi stopien studiow
A — profil ogolnoakademicki
ic — kod Kkierunku,
po znaku podkreslenia:
W — kategoria wiedzy, U — kategoria umiejetnosci, K — kategoria kompetencji spotecznych
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Opis efektow uczenia si¢ dla kierunku studiéw

Odniesienie do charakterystyk PRK

Charakterystyki drugiego stopnia
typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych
w ramach szkolnictwa wyzszego (S)

Symbol . -
kierunkowych Inzynieria chemiczna i procesowa #”"I’(Vtersa'Pek_ Charakterystyki dla
5 , . . Charakterystyki . kwalifikacji na
efektow Po ukonczeniu kierunku studiow ierwsze Charakterystyki anar
uczenia si¢ : PISTWSZEID | dla kwalifikacji | POZiomie 7 PRK,
absolwent: stopnia (U) ITIKe umozliwiajacych
na poziomie kani
7 PRK uzys anle__
kompetencji
inzynierskich
WIEDZA (W)
K2Aic_WO01 | Posiada pogl¢biong wiedze¢ na temat materialow, aparatow i urzadzen stosowanych w procesach P7TU_W P7S_WG P7S WG _INZ
chemicznych, w r6znej skali.
K2Aic_WO02 | Zna metody szacowania kosztéw inwestycyjnych i ruchowych instalacji przemystowych. P7TU_W P7S_WG
K2Aic_WO03 | Posiada rozszerzong wiedz¢ matematyczna i zna rozbudowane narzedzia projektowania i P7U_W P7S_WG
optymalizacji procesow chemicznych w rdznej skali
K2Aic_WO04 | Posiada wiedze o tworzeniu i realizacji projektu przemystowego. P7U_W P7S_WG P7S_WG_INZ
K2Aic_WO05 | Posiada wiedze na temat bioinzynierii, w tym w zakresie tworzenia (projektowania), optymalizacji P7TU_ W P7S_WG P7S WG _INZ
procesow i/lub projektowania oraz zastosowan urzadzen diagnostycznych/pomiarowych.
K2Aic_W06 | Ma pogtebiong wiedz¢ o trendach rozwojowych i nowych osiagnigciach w zakresie inzynierii P7TU_W P7S_WG P7S WG _INZ
chemicznej i procesowej.
K2Aic_WO07 | Zna podstawowe pojecia dotyczace przedsigbiorczosci i funkcjonowania przedsigbiorstwa. P7TU_ W P7S_WK P7S WK _INZ
UMIEJETNOSCI (U)
K2Aic_U01 Potrafi przeprowadzi¢ ztozone (zintegrowane) procesy chemiczne na aparaturze w dowolnej skali i P7U_U P7S_UW P7S UW_INZ
opisa¢ matematycznie ich wydajnos¢.
K2Aic_U02 Potrafi wykorzysta¢ metody analityczne i programy symulacyjne do rozwigzywania ztozonych zadan P7U_U P7S_UW P7S UW_INZ
w zakresie procesow chemicznych prowadzonych w roznej skali.
K2Aic_U03 Potrafi oszacowa¢ koszty inwestycyjne i ruchowe instalacji przemystowych. Potrafi zaprojektowaé P7U_U P7S_UW P7S UW_INZ
uktad integrujacy rézne procesy jednostkowe i uzasadnic jego ekonomike.
K2Aic_U04 Potrafi wykorzysta¢ zaawansowane oprogramowanie komputerowe do modelowania proceséw P7U_U P7S_UW P7S_ UW_INZ

chemicznych lub materialéw w nich stosowanych.
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K2Aic_U05 | Potrafi zaproponowaé i opisaé proces z udziatlem biokomponentow. P7U_U P7S_UW P7S_UW_INZ

K2Aic_U06 Pozyskuje, krytycznie ocenia i tworczo przetwarza informacje z literatury naukowej, baz danych P7U_U P7S_UW
oraz innych wlasciwie dobranych zrédet, takze angloj¢zycznych. P7S UU

K2Aic_U07 Wykorzystuje zdobyta wiedz¢ z pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych w formutowaniu P7U_U P7S_UW
i rozwigzywaniu ztozonych 1 nietypowych probleméw w zakresie inzynierii chemiczne;.

K2Aic_U08 Wykazuje umiejetnos$é pracy w zespole, przyjmujac rozne role (takze wiodaca) rowniez w przypadku P7U_U P7S_UK
porozumiewania si¢ w jezyku obcym. P7S UO

K2Aic_U09 Potrafi samodzielnie planowac i realizowac ciagte doksztatcanie si¢ w zakresie inzynierii chemicznej P7U_U P7S_UU
i naukach pokrewnych. Potrafi przekaza¢ swoja wiedz¢ innym.

K2Aic_U10 Potrafi postugiwacé si¢ jezykiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia P7U_U P7S_UK
Jezykowego.

KOMPETENCJE SPOLECZNE (K)

K2Aic_KO01 Jest gotow do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych tresci. P7U_K P7S_KK

K2Aic_K02 Rozumie potrzebe przedsigbiorczego myslenia i dziatania oraz jest §wiadomy potrzeby dziatania na P7U_K P7S_KO
rzecz interesu publicznego.

K2Aic_KO03 Rozumie potrzebe podejmowania inicjatyw, inspirowania i organizowania dziatalno$ci na rzecz P7U_K P7S_KO
otoczenia spoteczno-gospodarczego.

K2Aic_K04 Odpowiedzialnie wspotdziata w grupie przyjmujac w niej réozne role, w tym kierownicze. P7U_K P7S_KR

K2Aic_KO05 Jest gotow do przestrzegania zasad etyki zawodowej 1 poszanowania prawa, w tym praw autorskich. P7U_K P7S_KR

K2Aic_KO06 Uznaje wazno$¢ 1 rozumie pozatechniczne aspekty i skutki dziatalnoSci naukowej i inzynierskiej, w P7U_K P7S_KK
tym jej wptyw na srodowisko, a takze zwigzang z tym odpowiedzialnos¢. P7S KO

K2Aic_KO07 Ma $wiadomos¢ spotecznej roli absolwenta uczelni technicznej i konieczno$ci podtrzymywania etosu P7U_K P7S_KR

zawodu inzyniera.

K2Aic_KO08 Jest gotow do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiazywaniu probleméw w zakresie inzynierii P7U_K P7S_KK
chemicznej i nauk pokrewnych; uznaje potrzebe zasiggania opinii ekspertow w razie trudnosci w
rozwigzywaniu problemow.
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Zalacznik D
DODATKOWE EFEKTY KSZTALCENIA DLA STUDIOW 4-SEMESTRALNYCH
Odniesienie do ogoélnych charakterystyk efektow
Charakterystyki drugiego stopnia
typowe dla kwalifikacji
) uzyskiwanych w ramach szkolnictwa
Symbol Opis efektow uczenia si¢ dla kierunku wyzszego (S)
kierunkowych Inzynieria chemiczna i procesowa Uniwersalna Charakterystyki
efektow Po ukof i kierunku studia charakterystyka dla kwalifikacji na
uczenia sig 0 ukonczeniu 1emr¥ u studiow prerwszego Charakterystyki poziomie
absolwent: stopnia (U) | dla kwalifikacji 7 PRK,
na poziomie umozliwiajacych
7 PRK uzyskanie
kompetencji
inzynierskich
WIEDZA (W)
K2Aic_Wo08 Ma ogolng wiedzg w zakresie poje¢ podstawowych i potrafi wykorzysta¢ techniki matematyki P7TU_ W P7S_WG P7S WG Inz
wyzszej do iloSciowego opisu procesow fizycznych i fizykochemicznych.
K2Aic_W09 Zna podstawowe aspekty budowy i dzialania aparatury chemicznej stosowanej w przemysle. P7TU_W P7S_WG P7S WG _Inz
K2Aic_W10 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym wybrane procesy, zjawiska, metody i teorie P7TU W P7S_ WG P7S_ WG Inz
stanowigce podstawe do zdobywania poglebionej wiedzy na studiowanym kierunku.
K2Aic_W11 Zna chemiczna, technologiczng lub biotechnologiczna koncepcje procesu, ma wiedz¢ na temat P7TU_W P7S_WG P7S WG _Inz
bilansow materiatowych i energetycznych.
K2Aic_W12 Zna i rozumie podstawowe pojecia zakresu inzynierii chemiczne;. P7TU_ W P7S_WG P7S WG Inz
K2Aic_W13 Zna i opisuje podstawowe pojecia 1 przepisy z zakresu bezpieczenstwa technicznego w P7U_W P7S_WG P7S WG Inz
laboratorium i/lub przemysle chemicznym.
K2Aic_W14 Zna 1 opisuje najwazniejsze procesy i/lub operacje jednostkowe w technologii chemicznej lub P7U_W P7S_WG P7S WG Inz
biotechnologii/mikrobiologii przemystowe;.
K2Aic_W15 Ma wiedzg w zakresie doboru surowcow i materiatow do procesu oraz sterowania nim w celu P7TU_W P7S_WG P7S WG Inz
uzyskania optymalnych efektow z punktu widzenia wydajnosci operacji lub procesu.
K2Aic_W16 Posiada szczegdtowa wiedze z zakresu wybranych zagadnien ochrony srodowiska i/lub odzysku P7U_W P7S_WG P7S WG Inz
i recyklingu materialdéw z uwzglednieniem uwarunkowan ekonomicznych i prawnych. P7S WK

4
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K2Aic_W17 Zna i rozumie podstawowe procesy zachodzace w urzadzeniach, obiektach i systemach P7TU_ W P7S_WG P7S WG Inz
inzynieryjno-technicznych, chemicznych lub biotechnologicznych.
UMIEJETNOSCI (U)
K2Aic_U11 Potrafi wykona¢ podstawowe obliczenia z zakresu inzynierii chemiczne;j. P7U_U P7S_UW P7S UW Inz
K2Aic_U12 Umie czyta¢ rysunki projektowe i je tworzy¢, zgodnie z zasadami rysunku technicznego. P7U_U P7S_UW P7S UW _Inz
K2Aic_U13 Potrafi wykorzystywac aplikacje systemu CAD w zadaniach o charakterze inzynierskim. P7U_U P7S_UW P7S UW Inz
K2Aic_U14 Umie stosowa¢ dostgpne technologie informacyjne. P7U_U P7S_UW P7S UW Inz
K2Aic_U15 Potrafi opracowa¢ wyniki pomiardéw i oszacowac btad metody pomiarowe;. P7U_U P7S_UW P7S UW Inz
K2Aic_U16 Potrafi okresli¢ rodzaje zagrozen w laboratorium chemicznym i/lub w przemysle chemicznym P7U_U P7S_UW P7S UW _Inz
oraz zaproponowac sposoby zapobiegania wypadkom i awariom.
K2Aic_U17 Umie zaprojektowac i zbudowaé prosty uktad laboratoryjny do prowadzenia procesu i/lub P7U_U P7S_UW P7S UW Inz
zaprojektowa¢ schemat technologiczny prostego procesu chemicznego.
K2Aic_U18 Potrafi wykorzystywac¢ posiadang wiedzg, a takze dostgpne zrodta do formulowania, P7U_U P7S_UW P7S UW Inz
krytycznej analizy i prezentacji ztozonych probleméw o charakterze
praktycznym/technologicznych/inzynieryjnym.




1.  Opis ogdlny
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OPIS PROGRAMU STUDIOW

1.1 Liczba semestrow:

1.2 Calkowita liczba punktow ECTS konieczna do ukonczenia studiow na danym poziomie:

4 120
1.3 Laczna liczba godzin zajec: 1.4 Wymagania wstepne (w szczegolnosci w przypadku studiow drugiego stopnia):
1470 sq okreslone w zarzqdzeniu: ,, Warunki i tryb rekrutacji” w Politechnice Wroclawskiej
1335

1.5 Tytut zawodowy nadawany po zakonczeniu studiow

1.6 Sylwetka absolwenta, mozliwosci zatrudnienia:

magister inynier

Absolwent posiada rozszerzonqg wiedz¢ z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz wumiejetnosci:
profesjonalnego rozwigzywania probleméw z zakresu inzynierii chemicznej, prowadzenia zaawansowanych badarn
doswiadczalnych, proponowania i optymalizowania nowych rozwigzar oraz samodzielnego analizowania probleméw z zakresu
inzynierii chemicznej i procesowej. Absolwent jest przygotowany do: pracy tworczej w zakresie projektowania operacji i
proces6w stosowanych w przemysle chemicznym i pokrewnych oraz podejmowania decyzji z uwzglednieniem uwarunkowan
technicznych, prawnych i logistycznych. Przygotowanie absolwenta umozliwia mu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej.
Ponadlto jest przygotowany do podjecia studiow 3. stopnia.

1.7 Mozliwos¢ kontynuacji studiow

1.8 Wskazanie zwigzku z misjg Uczelni i strategia jej rozwoju:

Mozliwosé ubiegania si¢ o przyjecie do szkoly doktorskiej,
studia podyplomowe

Misja i strategia rozwoju Politechniki Wroctawskiej zostaly okreslone w dokumencie pt: ,, Plan Rozwoju Politechniki
Wroctawskiej”. Zasadniczq misjg jest ksztaltowanie tworczych, krytycznych i tolerancyjnych osobowosci studentéw i
doktorantéw oraz wytyczanie kierunkéw rozwoju nauki i techniki. Szczeg6lny nacisk Uczelnia kfadzie na podtrzymanie i
rozwijanie kompetencji zwigzanych z kulturg eksperymentu. Programy studidw harmonizujq proporcje wiedzy bezposrednio
przydatnej zawodowo, wiedzy umozliwiajgcej pézniejsze adaptacje zawodowe oraz wiedzy ksztaltujgcej racjonalny obraz swiata.
Program studidw Il stopnia na kierunku InZynieria chemiczna i procesowa wpisuje si¢ W powyzsze cele poprzez: (1) rozwijanie
tworczych umiejetnosci 0 charakterze pracy naukowej poprzez zwigkszony wymiar zaje¢ zwigzanych z realizacjq pracy
dyplomowej, (2) duzy utamek (pomad 50 %) zaje¢ czynnych, jak laboratoria, ¢wiczenia, seminaria i projekty, (3) dbatos¢ o
réownowage pomiedzy przekazywang wiedzg ogdlng, a specjalistyczng, (4) réznorodne ksztalcenie specjalistyczne w ramach
oferowanych specjalnosci, (5) dostarczanie studentom wiedzy i umiejetnosci obejmujgcych najnowsze osiggnigcia nauki i
technologii, (6) formowanie czesciowo indywidualnych profili studentéw poprzez mozliwosé uczestniczenia w kursach
wybieralnych, (7) rozwijanie osobowosci studentow poprzez udziaf w kursach humanistycznych, (8) czesciowe przygotowanie
studentow do przyszlego samodzielnego zycia poprzez zajecia menadzerskie i ekonomiczne, (9) rozwoj ogdlny poprzez
mozliwos¢ doskonalenia znanego jezyka obcego i nauki drugiego jezyka




2.  Opis szczegolowy
2.1 Calkowita liczba efektow uczenia si¢ w programie studiow:
W (wiedza)
U (umiejetnosci)
K (kompetencje spoteczne)
Lacznie

17
18
8

43

2.2 Dla kierunku studiow przyporzadkowanego do wigcej niz jednej dyscypliny — liczba efektow uczenia si¢ przypisana do dyscypliny:

100%

2.3 Dla kierunku studiow przyporzadkowanego do wigcej niz jednej dyscypliny — procentowy udziat liczby punktow ECTS dla kazdej z dyscyplin:

100% pkt ECTS

2.4. Dla kierunku studiow o profilu ogdlnoakademickim — liczba punktéw ECTS przypisana zajeciom zwiazanym z prowadzona w Uczelni dzialalnoscia naukowa w dyscyplinie lub
dyscyplinach, do ktérych przyporzadkowany jest kierunek studiéw (musi by¢ wicksza niz 50% catkowitej liczby punktow ECTS z p. 1.1.)

Inzynieria proceséw chemicznych IPC

Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow oznaczy¢ symbolem GK)

Liczba pkt. ECTS

Metody badan materiatow

2

Pomiary w aparaturze procesowej

Podstawowe procesy jednostkowe w technologii chemicznej

Podstawy technologii chemicznej

Materialoznawstwo

Podstawy inzynierii chemicznej

Recykling materialow

Aparatura procesowa

Programy symulacji i projektowania instalacji chemicznych

Metody optymalizacji proceséw

Krystalizacja

Dynamika systemow i sterowanie

Symulacje procesow metoda CFD

Inzynieria przemystowych procesoéw biotechnologicznych

Technologie w inzynierii Srodowiska

Nowoczesne procesy przemyslowe BAT

Gospodarka odpadami przemystowymi

Inzynieria i technologia produktu

Nanoinzynieria chemiczna

Odnawialne Zrodta energii

Procesy suszarnicze

Techniki membranowe rozdzielania mieszanin

Praca dyplomowa |
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Praca dyplomowa Il

=
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=
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Projektowanie proceséw chemicznych PPC

Nazwa kursu/grupy kurséw (grup¢ kurséw oznaczy¢ symbolem GK)

Liczba pkt. ECTS

Metody badan materiatlow

2

Pomiary w aparaturze procesowej

Podstawowe procesy jednostkowe w technologii chemicznej

Podstawy technologii chemicznej

Materialoznawstwo

Aparatura procesowa

Programy symulacji i projektowania instalacji chemicznych

Ekonomika procesow

Metody optymalizacji proceséw

Krystalizacja

Dynamika systemoéw i sterowanie

Symulacje procesow metoda CFD

Modelowanie proces6w

Procesy biotechnologiczne

Konstrukcja aparatury procesowej

Inzynieria systemow procesowych

Projektowanie instalacji przemystowych

Zjawiska transportu w procesach chemicznych

Praca dyplomowa |
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Mikroinzynieria chemiczna

w

o
o

Advanced Chemical Engineering and Nanotechnology ACN

Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow oznaczy¢ symbolem GK)

Liczba pkt. ECTS

Chemical informatics 2
Environment protection 2
Introduction to materials science and engineering 2
Recycling of materials 2
Biotechnology with introduction to industrial microbiology 3
Trends in chemical engineering development 1
Nanoengineering - fundamentals and applications 12
Chemical Processes Equipment and Methods 15
Statistical analysis of experimental data 2
Chemical processes project designed and management 13
Heterogenous processes in chemical, food and farmaceutical industry 13
Graduate laboratory | 4
Graduate seminar + Master Thesis 10
Graduate laboratory Il 10




Chemical Nanoengineering CNE

Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kurséw oznaczy¢ symbolem GK) Liczba pkt. ECTS

Nano-Electrochemistry 3

Solid State Chemistry and Nanomaterials

Basic Quantum Chemistry Modelling

Thermodynamics of Materials-Interactions and Surface Forces

Structure and Crystallography of solids

Synthesis and Fabrication of Nano-engineering Systems

Fabrication of Smart Polymers

Engineering of Nano-machines

Bio-photonics

Nanostructures in Industrial and Numerical Application

Nanoscale Synthesis Methods

Macromolecular and Supramolecular Chemistry

Characterization of Nano-engineering Systems

Nanoscale Energy Technology,Nano-sensors and Microfluidics

NMR of Nanosystems

Structural and Function Properties of Biopolymers

Nanoscale Structural Transformations and Kinetics

Probability and Statistical Methods for Modelling Engineers

Computational Modelling of Nano-Systems

w|N|[oojlojo|lo|jo|joafo|aNDIN[wWwlwlw|(w|lw| N

Organic chemistry of Nanomaterials

Master Thesis

w
o

115

2.5. Zwigzta analiza zgodnosci zaktadanych efektow uczenia si¢ z potrzebami rynku pracy

Potrzeby rynku pracy w zakresie Inzynierii Chemicznej i Procesowej zostaly posrednio przedstawione w niniejszym Programie Studiow w pozycji Sylwetka absolwenta, mozliwosci zatrudnienia.
Wymienione tam przygotowanie absolwentow odzwierciedlajg miedzy innymi nastepujgce efekty uczenia sie:

- Ma wiedz¢ 0 trendach rozwojowych i nowych osiggnigciach w zakresie inzynierii chemicznej. Potrafi oceni¢ przydatnosé i mozliwosé wykorzystania nowych osiggnie¢ w zakresie inzynierii
chemicznej,

- Posiada podstawowq wiedze o procesach zarzgdzania. Zna funkcje, zasady i instrumenty zarzqdzania, w tym zarzqdzania jakosciq, oraz identyfikuje podstawowe problemy zarzqdzania,

- Posiada wiedz¢ dotyczqcq projektowania procesowego aparatdw i systemoOw, korzystania z technik komputerowych, integracji i intensyfikacji procesu, wykonania pefnego projektu
procesowego,

- Potrafi za pomocg narzedzi komputerowych badac i symulowac dynamikq roznych procesow.



2.6. Laczna liczba punktow ECTS, ktorg student musi uzyskac¢ na zajeciach wymagajacych bezposredniego udziatu nauczycieli akademickich lub innych oséb prowadzacych zajecia i studentow
(wpisa¢ sumg punktéw ECTS dla kurséw/ grup kursow oznaczonych kodem BKl)

IPC 69,85 ECTS
PPC 70,40 ECTS
ACN 70,25 ECTS
CNE 62,14 ECTS

2.7. Laczna liczba punktow ECTS, ktorg student musi uzyska¢ w ramach zajg¢¢ z zakresu nauk podstawowych

IPC i PPC
Liczba punktow ECTS z przedmiotow obowigzkowych 3
Liczba punktéw ECTS z przedmiotéw wybieralnych 0
Laczna liczba punktow ECTS 3
ACN
Liczba punktow ECTS z przedmiotéw obowiazkowych 8
Liczba punktéw ECTS z przedmiotéw wybieralnych 0
Laczna liczba punktow ECTS 8
CNE
Liczba punktow ECTS z przedmiotéw obowiazkowych 10
Liczba punktéw ECTS z przedmiotéw wybieralnych 0
Laczna liczba punktow ECTS 10




2.8. Laczna liczba punktow ECTS, ktora student musi uzyska¢ w ramach zaje¢ o charakterze praktycznym, w tym zajg¢é laboratoryjnych i projektowych (wpisa¢ sumg punktow ECTS kursow/grup
kurséw oznaczonych kodem P)

IPC
Liczba punktéw ECTS z przedmiotéw obowiazkowych 12
Liczba punktéw ECTS z przedmiotéw wybieralnych 57
Laczna liczba punktow ECTS 69
PPC
Liczba punktow ECTS z przedmiotoéw obowiazkowych 12
Liczba punktéw ECTS z przedmiotéw wybieralnych 63
Laczna liczba punktow ECTS 75
ACN
Liczba punktéw ECTS z przedmiotéw obowiazkowych 11
Liczba punktéw ECTS z przedmiotéw wybieralnych 58
Laczna liczba punktéw ECTS 69
CNE
Liczba punktow ECTS z przedmiotéw obowiazkowych 6
Liczba punktéw ECTS z przedmiotéw wybieralnych 79
Laczna liczba punktéw ECTS 85

2.9.Minimalna liczba punktéw ECTS, ktora student musi uzyskac, realizujac bloki ksztalcenia oferowane na zajeciach ogélnouczelnianych lub na innym kierunku studiow (wpisa¢ sume punktow
ECTS kursow/grup kurséw oznaczonych kodem O)

IPCiPPC 3 ECTS
ACN 3 ECTS
CNE 6 ECTS




2.10. Laczna liczba punktow ECTS, ktora student moze uzyskac, realizujac bloki wybieralne (min. 30 % catkowitej liczby punktow ECTS)
IPC 87 ECTS
PPC 87 ECTS
ACN 84 ECTS
CNE 110 ECTS

3. Opis procesu prowadzacego do uzyskania efektow uczenia sie:

Weryfikacja i ocena efektow uczenia si¢ wraz z odniesieniem do kursow lub grup kurséw w trakcie catego cyklu ksztatcenia odbywa si¢ w odniesieniu do informacji zawartych w kartach
przedmiotow (sylabusach). Student zdobywa wiedzg¢ i umiejetnosci uczestniczac w zajeciach teoretycznych i praktycznych, ktére w znacznym stopniu bazuja na wynikach badan naukowych
prowadzonych przez nauczycieli akademickich — opiekunéw kursow i prowadzacych zajecia ze studentami. Podstawe ksztalcenia stanowig kursy laboratoryjne, seminaryjne i projektowe.
Ksztalcenie na kierunku studiow prowadzone jest zgodnie z zasada zwigkszania stopnia skomplikowania zadan teoretycznych i praktycznych stawianych przed studentami. Do praktyki
dydaktycznej wdrazane sa nowoczesne metody ksztalcenia, dzigki czemu rosénie aktywnos¢ studentow trakcie zajgé. Kursy teoretyczne o charakterze wyktadow i seminaridéw uzupetniane sg o
zajecia projektowe i laboratoryjne, ktore obejmujg m.in.: modelowanie i projektowanie komputerowe, a takze prowadzenie badan naukowych. Program uzupetniaja przedmioty humanistyczne i
lektoraty. Tok ksztatcenia konczy si¢ egzaminem dyplomowym sprawdzajacym wiedzg teoretyczng studenta oraz obrong pracy dyplomowej magisterskiej.



4. Lista blokow zajeé:
4.1. Lista blokow zaje¢ obowiazkowych:
4.1.1 Lista blokéw ksztalcenia ogdlnego

4.1.1.1 Blok Przedmioty humanistyczno-menedzerskie (min. ... pkt. ECTS):

L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kurséw oznaczy¢ symbolem Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kurséw
kurséw GK) godzin godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlé¢| 1 |p]s ZZU [ CNPS | taczna | zajeé grupy ogolno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
Razem oJoJofoJo [ [ o o 0 0
4.1.1.2 Blok Jezyki obce (min. .......... pkt ECTS):
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kurséw oznaczy¢ symbolem Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kurséw
kurséw GK) godzin godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wile| I |[p]|s ZZU | CNPS | taczna | zajeé grupy o0g6lno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
Razem ofoJofo]o [ [ o[ o 0 0
4.1.1.3 Blok Zajecia sportowe (0 pkt ECTS):
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow oznaczy¢ symbolem Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia sie Liczba Liczba pkt. Forma Sposoéb Kurs/grupa kurséw
kurséw GK) godzin godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wile| I |[p]|s ZZU | CNPS | taczna | zajeé grupy o0g6lno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
Razem ofoJofofo [ [ 0| o 0 0
4.1.1.4 Technologie informacyjne (2 pkt ECTS):
IPC i PPC
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursoéw (grupe kurséw oznaczy¢ symbolem Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposéb Kurs/grupa kurséw
kurséw GK) godzin godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlé| 1 |p]s ZZU | CNPS | faczna | zajeé grupy ogolno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK kurséw uczelniany | praktycznym
1 [T1C011003 | _|Technologie informacyine B 2 K2Aic Ul4 | | 3060 [ 2 | 14 T z ) KO | ob
Razem of[o[2]o]0 | | 30| 60 [ 2 14

Razem dla blokéw ksztalcenia ogélnego

IPC i PPC

Eaczna liczba godzin . . . .
Laczna liczba godzin ZZU chznagf\:ﬁg godzin Laczna liczba pkt. ECTS LICZba7[;l:Inc!(t](3J]V<\l ECTS
¢l 1t lp]s e
ofol2]0]O0 30 60 2 14




4.1.2 Lista blokow z zakresu nauk podstawowych

4.1.2.1 Blok Matematyka

IPC i PPC
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grup¢ kurséw oznaczy¢ symbolem Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kurséw
kurséw GK) godzin godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlé¢| 1 |p]s ZZU [ CNPS | taczna | zajeé grupy ogolno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
1 |1CC023048w [Metody optymalizacji procesow 1 K2Aic W03 15 | 60 2 0,65 T Y4 PD | Ob
Razem 1]1]0]0[0]0O 15 | 60 2 0,65 0
ACN
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kurséw oznaczy¢ symbolem Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) godzin godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlé| I [p]s ZZU | CNPS | faczna | zaje¢ grupy ogblno- | o charakterze | rodzaj | typ
kursow .
BK uczelniany | praktycznym
1 |MAC024022w |Statistical analysis of experimental data 1 K2Aic W03 15 | 60 2 0,65 T Y4 PD | Ob
Razem 1{0/0f0]O0 15| 60 2 0,65 0
CNE
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow oznaczy¢ symbolem Semestralna liczba Symbol efektu uczenia sie Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) godzin godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wilc| I |p]|s ZZU | CNPS | faczna | zajec¢ grupy ogolno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
1 |ICC025015w |Computational Modelling of Nano-Systems 24 K2Aic_W03 24 [ 90 3 1,04 Y4 PD | Ob
2 |1CC025015¢c  |Computational Modelling of Nano-Systems 21 K2Aic_U04 21 | 60 2 0,98 Y4 P PD | Ob
3 [ICC025015] |Computational Modelling of Nano-Systems 18 K2Aic_U04 18 | 60 2 0,84 Y4 P PD | Ob
Razem 24121/18( 0] 0 63 [ 210 7 2,86 0 4
4.1.2.3 Blok Chemia
IPC
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow oznaczy¢ symbolem Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia sie Liczba Liczba pkt. Forma Sposéb Kurs/grupa kurséw
kurséw GK) godzin godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlé| I [p]s ZZU | CNPS | faczna | zaje¢ grupy ogélno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
1 [ICC023067w |Nanoinzynieria chemiczna 1 K2Aic W01 K2Aic W06 15| 30 1 0,65 T Y4 PD | Ob
Razem 1{0/0f0]O 15| 30 1 0,65 0
PPC
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow oznaczy¢ symbolem Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia sie Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) wlé| I |p]|s ZZU [ CNPS | taczna | zajeé kursu/ | zaliczenia| og6lno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK grupy uczelniany | praktycznym
o
1 [ICC023057w |Mikroinzynieria chemiczna 1 K2Aic W01 K2Aic W06 15| 30 1 0,65 T Y4 PD | Ob
Razem 1{0/0f0]O 15| 30 1 0,65 0




ACN

L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grup¢ kurséw oznaczy¢ symbolem Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) wi el I |p]|s ZZU [ CNPS | faczna | zajgé kursu/ | zaliczenia| ogélno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK grupy uczelniany | praktycznym
kursow
1 |1ICC024033w [Nanoengineering-fundamentals and applications 4 K2Aic_W01 K2Aic_W03 K2Aic_W06 60 [ 180 6 2,6 T E PD | Ob
Razem 410]0]0]0 60 | 180 6 2,6 1
CNE
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursoéw (grupe kurséw oznaczy¢ symbolem Semestralna liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) godzin godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
w | ¢ | p| s ZZU | CNPS | faczna | zajec¢ grupy ogolno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
1 [ICC025013w |Organic chemistry of Nanomaterials 15 K2Aic W01 15| 30 1 0,65 y4 PD | Ob
2 [ICC025013c  |Organic chemistry of Nanomaterials 9 K2Aic U01 K2Aic U02 9 30 1 0,42 Y4 P PD | Ob
3 |ICC025013I Organic chemistry of Nanomaterials 3 K2Aic U01 K2Aic U02 K2Aic_K04 3 30 1 0,14 Y4 P PD | Ob
Razem 15/9]1 3|00 27 [ 90 3 1,21 0 2

Razem dla blokéw z zakresu nauk podstawowych

IPC PPC
ACN
CNE

Laczna liczba godzin

Laczna liczba godzin ZZU

Laczna liczba godzin

Laczna liczba pkt. ECTS

Liczba punktéw ECTS

CNPS zaje¢ BK
¢l I |p|s
20]0]0]O 30 90 3 13
5[0]0]0]O 75 240 8 3,25
39|30(21|]0] 0 90 300 10 4,07




4.1.3 Lista blokéw kierunkowych

4.1.3.1 Blok Przedmioty obowiazkowe kierunkowe

ICP i PPC
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grup¢ kurséw oznaczy¢ symbolem Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kurséw
kurséw GK) godzin godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlé¢| 1 |p]s ZZU [ CNPS | taczna | zajeé grupy ogolno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK kurséw uczelniany | praktycznym
1 |[TCCO014006w |Bezpieczenstwo techniczne 1 K2Aic W13 15 | 30 1 0,65 T YA K Ob
2 |TCC014006 | |Bezpieczenstwo techniczne. 1 K2Aic_U15 K2Aic_U16 15| 30 1 0,7 T Y4 P K Ob
3 |ELR021225w |Metody badan materiatow 2 K2Aic W15 30 | 60 2 1,3 T E K | Ob
4 [1ICC013008w |Pomiary w aparaturze procesowej 2 K2Aic W09 30 | 60 2 1,3 T Y4 K Ob
5 |1CC013008I Pomiary w aparaturze procesowej. 2 K2Aic U15 K2Aic U17 30 | 60 2 1,4 T Y4 P K Ob
6 |TCC015003w |Podstawowe procesy jednostkowe w technologii 2 K2Aic_W09 K2Aic_W14 K2Aic_W15 K2Aic_W17 30 | 90 3 13 T E K | Ob
chemicznej
7 |TCC014001w |[Podstawy technologii chemicznej 2 K2Aic W08 K2Aic W11 K2Aic W14 30 | 90 3 1,3 T y4 K Ob
8 |TCC014001p [Podstawy technologii chemicznej. 2 K2Aic U1l K2Aic U17 K2Aic U18 30 | 60 2 15 T Y4 P K Ob
9 [IMC012002w |Materialoznawstwo 2 K2Aic W15 30 | 60 2 1,3 T VA K Ob
10 |GFC011001 | |Grafika inzynierska 2 K2Aic U12 K2Aic U13 30 | 60 2 1,4 T y4 P K Ob
11 [ICC013003w __|Podstawy inzynierii chemicznej 2 K2Aic W08 K2Aic W10 K2Aic W11 K2Aic W12 30 | 90 3 1,3 T Y4 K [ Ob.
12 [ICC013003c  |Podstawy inzynierii chemiczne;j. 2 K2Aic U1l 30| 90 3 1,4 T y4 P K Ob
13 [IMC015016w |Recykling materiatow 2 K2Aic W16 30 | 60 2 1,3 T Y4 K | Ob
Razem 152|520 360 | 840 28 16,15 2 10
ACN
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow oznaczy¢ symbolem Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia sie Liczba Liczba pkt. Forma Sposéb Kurs/grupa kurséw
kursow GK) wlé| I |p]|s ZZU [ CNPS | laczna | zajeé kursu/ | zaliczenia| ogdlno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK grupy uczelniany | praktycznym
1 |TCC024022w _|Technical safety 1 K2Aic W13 15 | 90 3 0,65 T z K | Ob
2 |OSC024005w |Environment protection 2 K2Aic U15 K2Aic U16 30 [ 60 2 13 T Y4 K | Ob
3 |IMC024010w [Introduction to materials science and engineering 2 K2Aic W15 30 | 60 2 1,3 T Y4 K Ob
4 |ICR024024w |Measurement in chemical equipment 1 K2Aic W09 15| 60 2 0,65 T Y4 K | Ob
5 |ICR024024 1 [Measurement in chemical equipment. 2 K2Aic U15 K2Aic U17 K2Aic U16 30| 60 2 14 T YA P K Ob
6 |BTC024022w Bl_otech_nology with introduction to industrial 2 K2Aic_W09 K2Aic_W14 K2Aic_W11 K2Aic_W17 30 | 60 2 13 T 7 K |ob
microbiology
7 |BTC024022p Bl_otechnology with introduction to industrial 1 K2Aic_U12 15 | 30 1 0.75 T 7 P K | ob
microbiology.
8 |[TCC024023w |Fundamentals of chemical technology 2 K2Aic_W15 30 [ 60 2 13 T E K | Ob
9 |TCC024023p [Fundamentals of chemical technology. 2 K2Aic U1l K2Aic U15 K2Aic U18 K2Aic U13 30 | 60 2 15 T Y4 P K Ob
10 |INC024009 1 [Chemical informatics 2 K2Aic U13 K2Aic U14 K2Aic U15 30 [ 60 2 14 T Y4 P K | Ob
11 |GFC024002 1 [Technical drawing 2 K2Aic U12 K2Aic U13 30 | 60 2 1,4 T Z P K Ob
12 |1CC024025w |Introduction to chemical engineering 2 K2Aic_W08 K2Aic_W10 K2Aic_W11 K2Aic_W12 30 [ 60 2 13 T E K [ Ob.
13 [ICC024025¢ |Introduction to chemical engineering. 1 K2Aic U1l 15 | 60 2 0,7 T YA P K Ob
14 |IMC024009w [Recycling of materials 2 K2Aic W16 30 [ 60 2 13 T Y4 K | Ob
Razem 1416 (3]0 360) 840 | 28 | 16,25 2 11
Razem dla blokéw kierunkowych
Laczna liczba godzin Laczna liczba godzin ZZU chzna(l:lr(ilzs;sa godzin Laczna liczba pkt. ECTS LICZbaZ[;?gjt};JI\QI ECTS
wlé¢| I [p]s
IPCPPC| 15[ 2| 5|20 360 840 28 16,15
ACN| 141 6 | 3]0 360 840 28 16,25




4.2. Lista blokéw zajeé wybieralnych:
4.2.1 Lista blokow ksztalcenia ogélnego

4.2.1.1 Blok Przedmioty humanistyczno-menedzerskie (min. 5 pkt. ECTS):

IPCi PPC
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow Tygodniowa liczba godzin Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposéb Kurs/grupa kurséw
kurséw oznaczy¢ symbolem GK) ECTS kursu/ | zaliczenia
w ¢ | ZZU | CNPS | Iaczna | zajegé kgru;?y ogoélno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK ursow uczelniany | praktycznym
1 |1CC023070w Zarzadzanie projektami przemystowymi 1 K2Aic_Wo04 K2Aic_Wo07 K2Aic_K02 K2Aic_KO03 15 60 2 0,65 T z KO w
2 |1CC023070c Zarzadzanie projektami przemystowymi. 2 K2Aic_U05 K2Aic_U08 K2Aic_K02 K2Aic_KO03 30 90 3 1,4 T z KO W
Razem 1 2 0 45 150 5 2,05 0
ACN
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow Tygodniowa liczba godzin Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) ECTS kursu/ zaliczenia
w ¢ [ ZZU | CNPS | taczna | zaje¢ | 9MUPY ogolno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
1 |1CC024037w Project Management 1 K2Aic W04 K2Aic W07 K2Aic K02 K2Aic K03 15 60 2 0,65 T Y4 KO W
2 |ZMC024006w  |Business Management 2 K2Aic_Wo04 K2Aic_W07 K2Aic_K02 K2Aic_K03 30 90 3 1,3 T Y4 KO W
Razem 3 0 0 45 150 5 1,95 0
CNE
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow Semestralna liczba godzin Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) ECTS kursu/ zaliczenia
w B | ZZU | CNPS | taczna | zaje¢ | 9MUPY ogdlno- | ocharakterze | rodzaj | typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
1 [ICC025008w Economics and Management 30 K2Aic W04 K2Aic W07 K2Aic_ K02 K2Aic_KO03 30 90 3 1,3 Z KO | W
2 |1CC025008c Economics and Management 30 K2Aic _U03 K2Aic K02 K2Aic K03 30 60 2 14 Y4 P KO W
Razem 30 | 30 0 60 150 5 2,7 0 2




4.2.1.2 Blok Jezyki obce (min. 3 pkt ECTS):

IPCi PPC
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow Tygodniowa liczba godzin Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kurséw
kurséw oznaczy¢ symbolem GK) ECTS kursu/ | zaliczenia
w ¢ | p S ZZU | CNPS | Igczna | zaje¢ kgrupy ogélno- | ocharakterze | rodzaj | typ
BK ursow uczelniany | praktycznym
1 Jezyk obey II (A1/A2) 3 K2Aic_U08 45 60 2 1,8 T Y4 o P KO W
2 Jezyk obey I (B2+) 1 K2Aic_U08 K2Aic_U10 15 30 1 0,6 T Y4 o P KO W
Razem 0 4 0 0 0 60 90 3 2,4 0 3
ACN
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow Tygodniowa liczba godzin Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) ECTS kursu/ | zaliczenia
w ¢ | p S ZZU | CNPS | faczna | zajeé grupy ogdlno- | ocharakterze | rodzaj | typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
1 Foreign language | (B2+) 1 K2Aic U08 K2Aic U10 15 30 1 0,6 T Y4 (0] P KO W
2 Foreign language 1l (A1/A2) 3 K2Aic_U08 45 60 2 18 T Y4 (0] P KO W
Razem 0 4 0 0 0 60 90 3 2,4 0 3
CNE
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow Semestralna liczba godzin Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) ECTS kursu/ zaliczenia
w ¢ | p s ZZU | CNPS | Iaczna | zajgé grupy ogolno- | ocharakterze | rodzaj | typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
1 CHC025001¢c |Language(English) C2 18 K2Aic U08 K2Aic U10 18 60 2 0,84 Z (0] P KO W
2 JZL.100921c  |Language(English) C2 30 K2Aic_U08 K2Aic_U10 30 60 2 14 Y4 o P KO W
3 CHC025003¢c |Language(English) C2 18 K2Aic U08 K2Aic U10 18 60 2 0,84 Z (0] P KO W
Razem 0 66 0 0 0 66 180 6 3,08 0 6
Razem dla blokéw ksztalcenia ogolnego Laczna liczba godzin La,czn.a liczba La,czfla liczba Laczna liczba pkt. Liczba pantéw
w P | o] s godzin ZZU godzin CNPS ECTS ECTS zajg¢ BK
IPCiPPC| 1 6 0 0 0 105 240 8 4,45
ACN| 3 4 0 0 0 105 240 8 4,35
CNE| 30 96 0 0 0 126 330 11 5,78




4.2.2 Lista blokow z zakresu nauk podstawowych

4.2.2.1 Blok Matematyka

L.p. | Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/grupy kursow (grupg Tygodniowa liczba godzin Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma | Sposéb Kurs/grupa kurséw
kurséw kursow oznaczy¢ symbolem GK) ECTS kursu/ | zaliczenia
w ¢ | p| s ZZU | CNPS |1aczna | zajg¢ | 9rupy ogblno- | ocharakterze | rodzaj | typ
BK | kursow uczelnian | Praktycznym
Razem 0 0 0 0[O0 0 0 0 0
4.2.2.2 Blok Fizyka (min. .......... pkt ECTS):
L.p. | Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg Tygodniowa liczba godzin Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma | Spostb Kurs/grupa kurséw
kursow kurséw oznaczy¢ symbolem GK) ECTS kursu/ | zaliczenia
w ¢ | p| s ZZU | CNPS |1aczna | zajg¢ | 9rupy ogblno- | ocharakterze | rodzaj | typ
BK | kursow uczelnian | Praktycznym
Razem 0 0 0J]0]O 0 0 0 0
4.2.2.3 Blok Chemia (... pkt ECTS):
L.p. | Kod kursu/ grupy|  Nazwa kursu/grupy kursow (grupg Tygodniowa liczba godzin Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma | Sposéb Kurs/grupa kurséw
kurséw kurséw oznaczy¢ symbolem GK) ECTS kursu/ | zaliczenia
w ¢ | p| s ZZU | CNPS |Igczna | zajg¢ | 9rupy ogblno- | ocharakterze | rodzaj | typ
BK | kursow uczelnian | Praktycznym
Razem 0 0 0J]0]O 0 0 0 0

Razem dla blokéw z zakresu nauk
podstawowych

Laczna liczba godzin

Laczna liczba
godzin ZZU

Laczna liczba
godzin CNPS

Laczna liczba pkt.

ECTS

Liczba punktow
ECTS zajg¢ BK

¢ p
0 0 00

0

0

0

0




4.2.3 Lista blokéw kierunkowych

4.2.3.1 Blok Przedmioty wybieralne kierunkowe

L.p. | Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/grupy kursow (grupg Tygodniowa liczba godzin Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma | Sposéb Kurs/grupa kurséw
kurséw kursow oznaczy¢ symbolem GK) ECTS kursu/ | zaliczenia
w ¢ | p| s ZZU | CNPS |1aczna | zajg¢ | 9rupy ogblno- | ocharakterze | rodzaj | typ
BK | kursow uczelnian | Praktycznym
Razem 0 0 0 0[O0 0 0 0 0
4.2.3.2. Blok Profil dyplomowania
IPCi PPC
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow Tygodniowa liczba godzin Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kurséw
kursow oznaczy¢ symbolem GK) ECTS kursu/ | zaliczenia
w ¢ | p S ZZU | CNPS | faczna | zajec kgrupy ogoblno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK ursow uczelniany | praktycznym
1 |CHC020002I Praca dyplomowa I 4 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_KO07 K2Aic_KO08 60 120 4 3 T Z P K W
2 |CHCO020010 I Praca dyplomowa |1 14 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_KO07 K2Aic_KO08 210 | 300 10 8,5 T Z P K w
3 |ICC023001s Sem. dyplomowe +praca magisterska 1 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_KO01 K2Aic_KO05 15 300 10 5 T Z P K W
+przyg. do egz. dypl. K2Aic_K06
Razem 0 0 18101 285 | 720 24 16,5 0 24
ACN
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow Tygodniowa liczba godzin Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposéb Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) ECTS kursu/ | zaliczenia
w1 [p]ls ZZU | CNPS | faczna | zajec | oo B ogolno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK uczelniany | praktycznym
1 [CHC030009 I Graduate laboratory | 4 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_KO07 K2Aic_K08 60 120 4 3 T z P K w
2 |CHCO030008 | Graduate laboratory Il 14 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_KO07 K2Aic_KO08 210 | 300 10 8,5 T Z P K W
3 |ICC024001s Graduate seminar + Master Thesis 1 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_KO01 K2Aic_KO05 15 300 10 5 T z P K W
K2Aic_K06
Razem 0 0 18101 285 | 720 24 16,5 0 24
CNE
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow Semestralna liczba godzin Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) ECTS kursu/ | zaliczenia
w ¢ | p S ZZU | CNPS | faczna | zajeé grupy ogllno- | ocharakterze | rodzaj | typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
1| iccozs0301 | Master Thesis 360 K2Aic_U09 K2Aic_Ko7 K2Aic_ko8 K2Aic KOL - a6y | 900 | 30 | 18 z P s |w
K2Aic_K05
Razem 0 0 [360][ 0] O 360 | 900 30 18 0 30
Laczna liczba godzin Laczna liczba Laczna liczba Laczna liczba pkt. Liczba punktow
Razem dla blokéw kierunkowych aczn ac 2 pi. P
z W lderunkowy godzin ZZU godzin CNPS ECTS ECTS zajoé BK
w ¢ | p| s
IPCiPPC| 0 0 18|10 1 285 720 24 16,5
ACN| 0 0 1801 285 720 24 16,5
CNE| O 0 [360[0] O 360 900 30 18




4.2.4 Lista blokow specjalnosciowych

4.2.4.1 Blok Przedmioty specjalnoSciowe

IPC Inzynieria proceséw chemicznych (min. 53 pkt ECTS)

L.p. | Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/grupy kursow (grupg Tygodniowa liczba godzin Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma | Sposéb Kurs/grupa kurséw
kurséw kursow oznaczy¢ symbolem GK) ECTS kursu/ | zaliczenia
w ¢ I [ p| s ZZU | CNPS |laczna | zajeé¢ | grupy ogdlno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK | kurséw uczelniany | praktycznym

1 |ICC023047I Programy symulacji i projektowania 2 K2Aic_U04 30 90 3 1,4 T z P s W

instalacji chemicznych

2 [1CC023046w Ekonomika proceséw 1 K2Aic_W02 K2Aic_KO06 15 60 2 0,65 T yA S w

3 [1CC023046I Ekonomika proceséw. 2 K2Aic_U03 K2Aic_KO06 30 60 2 1,4 T Z P S w
4 |1CC023018w | Aparatura procesowa 2 K2Aic_W01 30 90 3 1,3 T E S w

5 |1CC023018p Aparatura procesowa.. 2 K2Aic_U01 30 60 2 15 T z P S w

6 |1CC023048I Metody optymalizacji proceséw. 2 K2Aic_U02 30 60 2 14 T Y4 P S W

7 [1CC023058w II}Z}mlerla prgemyskowych procesoéw 2 K2Aic_W05 K2Aic_WO06 20 90 3 13 T E s W

biotechnologicznych

8 [1CC023058I Ir}Zynieria pr;emys%owych procesow 2 K2Aic_U06 K2Aic_K04 20 60 2 14 T 2 P s W

biotechnologicznych.

9 [ICC023059w Technologie w inzynierii srodowiska 2 K2Aic W01 30 90 3 1,3 T E S W
10 |1CC023059p Technologie w inzynierii $rodowiska. 2 K2Aic_U07 30 60 2 15 T Y4 P S W
11 [ICC023060w Nowoczesne procesy przemystowe BAT 1 K2Aic W04 15 30 1 0,65 T Y4 S W
12 |1CC023061w Gospodarka odpadami przemystowymi 1 K2Aic_ W04 15 30 1 0,65 T Y4 S W
13 [ICC023052w Krystalizacja 1 K2Aic_W01 15 30 1 0,65 T z S wW
14 [1CC023052I Krystalizacja. 2 K2Aic_U01 K2Aic_K04 30 60 2 1,4 T z P S w
15 |1CC023053w Dynamika systemOw i sterowanie 1 K2Aic W03 15 60 2 0,65 T Z S W
16 [ICC023053I Dynamika systemdw i sterowanie. 3 K2Aic_U02 45 90 3 2,1 T Y4 P S W
17 |ICC023054w | Symulacje proceséw metodg CFD 1 K2Aic_W03 15 | 60 2 | 065 T E S w
18 [ICC023054I Symulacje procesdéw metodg CFD. 2 K2Aic_U04 30 90 3 14 T Y4 P S W
19 [ICC023062w Materialy funkcjonalne 2 K2Aic_ W01 30 60 2 1,3 T E S W
20 |1CC0230621 Materialy funkcjonalne. 2 K2Aic_U01 K2Aic_K04 30 60 2 14 T z P S W
21 [1CC023063w Inzynieria i technologia produktu 1 K2Aic_Wo04 15 60 2 0,65 T Z S W
22 (ICC023063l Inzynieria i technologia produktu. 2 K2Aic_U01 K2Aic_K04 30 | 60 2 1,4 T z P S w
23 |1CC023064w ;?:Qgiﬁ:nmembranowe rozdzielania 1 K2Aic_W01 15 60 2 0,65 T z S W
24 [1CC023064p ;?:Qgiﬁ:nr.nembranowe rozdzielania 1 K2Aic_U03 K2Aic_U05 15 60 2 0.75 T z P S W
25 [1CC023066wW Odnawialne zrodta energii 1 K2Aic_ W01 K2Aic_ W06 15 30 1 0,65 T Z S W
26 [1CC023065w Procesy suszarnicze 1 K2Aic_Wo01 15 30 1 0,65 T YA S w

Razem 18 0 19]5]0 630 | 1590 53 | 28,75 5 27




PPC Projektowanie proceséw chemicznych (min 53 pkt. ECTS)

L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow Tygodniowa liczba godzin Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kurséw
kursow oznaczy¢ symbolem GK) w ¢ | p s ZZU | CNPS | Iaczna | zajeé | kursu/ | zaliczenia | ogélno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK grupy uczelniany | praktycznym
1 |ICC023047I Programy symulacji i projektowania 2 K2Aic_U04 30 90 3 1,4 T z P s W
instalacji chemicznych
2 |ICC023046w Ekonomika procesow 1 K2Aic_W02 K2Aic_K06 15 60 2 0,65 T Z S W
3 |ICC023046I Ekonomika procesow. 2 K2Aic_U03 K2Aic_K06 30 60 2 1,4 T Z P S w
4 ]1CC023018w Aparatura procesowa 2 K2Aic_Wo01 30 90 3 1,3 T E S W
5 [ICC023018p Aparatura procesowa.. 2 K2Aic U01 30 60 2 1,5 T Z P S W
6 |1CC023048I Metody optymalizacji procesow. 2 K2Aic_U02 30 60 2 14 T Y4 P S W
7 |1CC023049w Modelowanie procesow 1 K2Aic_W03 15 60 2 0,65 T E S w
8 |1CC023049I Modelowanie procesow. 3 K2Aic_U04 45 90 3 2,1 T Y4 P S W
9 |1CC023050w Procesy biotechnologiczne 1 K2Aic W05 K2Aic W06 15 30 1 0,65 T Z S W
10 [ICC023050I Procesy biotechnologiczne. 2 K2Aic_U06 K2Aic_U07 K2Aic_K04 30 60 2 14 T Y4 P S W
11 [ICC023051w Konstrukcja aparatury procesowej 1 K2Aic W01 15 60 2 0,65 T Z S W
12 [ICC023051p Konstrukcja aparatury procesowej. 2 K2Aic_U03 30 60 2 15 T Y4 P S W
13 |ICC023052w Krystalizacja 1 K2Aic_W01 15 30 1 0,65 T Z S w
14 |1CC023052I Krystalizacja. 2 K2Aic_U01 K2Aic_K04 30 60 2 14 T z P S W
15 |1CC023053w Dynamika systemoOw i sterowanie 1 K2Aic W03 15 60 2 0,65 T Z S W
16 [ICC023053I Dynamika systemow i sterowanie. 3 K2Aic_U02 45 90 3 2,1 T Y4 P S W
17 [ICC023054w Symulacje proceséw metoda CFD 1 K2Aic_ W03 15 60 2 0,65 T E S W
18 [ICC023054I Symulacje procesdéw metodg CFD. 2 K2Aic_U04 30 90 3 14 T Y4 P S W
19 [ICC023068w Inzynieria systemow procesowych 1 K2Aic_ W03 15 60 2 0,65 T E S W
20 [ICC023068p Inzynieria systemow procesowych. 2 K2Aic_U02 30 90 3 15 T Y4 P S W
21 [1CC023069w Projektowanie instalacji przemystowych 1 K2Aic_ W03 15 30 1 0,65 T Y4 S W
22 1CC023069p Projektowanie instalacji przemystowych. 2 K2Aic_U03 K2Aic_U07 30 90 3 15 T z P S w
23 [1CC023055w ZJan_ska transportu w procesach 2 K2Aic_W03 20 60 2 13 T E S W
chemicznych
24 1CC023055p Zjawi_ska transportu w procesach 1 K2Aic U02 15 30 1 0.75 Z P S W
chemicznych. -
25 [1CC023057p Mikroinzynieria chemiczna. 2 K2Aic_U02 30 60 2 15 z P S Ob
Razem 13 0 18 |11 0 630 | 1590 53 29,3 5 33




ACN Advanced Chemical Enginneering and Nanotechnology ( min. 48 pkt ECTS)

L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow Tygodniowa liczba godzin Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kurséw
kursow oznaczy¢ symbolem GK) w ¢ | p s ZZU | CNPS | Iaczna | zajgé kursu/ | zaliczenia | ogélno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK grupy uczelniany | praktycznym
1 [1CC024032s Trends in chemical engineering 1 K2Aic_W06 K2Aic_U09 K2Aic_KO06 15 30 1 0,7 T z P S W
development

2 |1CC024033lI Nanoengineering-fundamentals and 2 K2Aic_U02 K2Aic_U04 K2Aic_U07 K2Aic_K04 30 60 2 1,4 T z P S W
applications.

3 |ICC024033s Nanoengineering-fundamentals and 2 K2Aic_U02 K2Aic_U04 K2Aic_U07 30 60 2 1,4 T z P S W
applications...

4 |1CC024033p Nanoengineering-fundamentals and 2 K2Aic_U02 K2Aic_U04 K2Aic_U07 30 60 2 15 T z P S W
applications..

5 |ICC024034w Chemical Processes Equipment and 4 K2Aic_Wo1 60 180 6 2,6 T E S W
Methods

6 |1CC024034I Chemical Processes Equipment and 4 K2Aic_U01 K2Aic_Ko04 60 120 4 2,8 T z P S W
Methods.

7 |1CC024034s Chemical Processes Equipment and 1 K2Aic_U01 15 30 1 0,7 T z P S W
Methods...

8 |ICC024034p Chemical Processes Equipment and 4 K2Aic_U01 60 120 4 3 T z P S W
Methods..

9 [1CC024035w Chemical processes project designed and | 3 K2Aic_W02 K2Aic_W03 K2Aic_W04 K2Aic_W07 45 | 150 5 1,95 T E S W
management

10 |1CC0240351 Chemical processes project designed and 1 K2Aic_U03 K2Aic_U04 K2Aic_U05 15 60 2 0,7 T Z P S W
management.

11 |ICC024035s Chemical processes project designed and 2 K2Aic_U03 K2Aic_U04 K2Aic_U05 30 60 2 1,4 T Z P S W
management...

12 |1CC024035p Chemical processes project designed and 4 K2Aic_U03 K2Aic_U04 K2Aic_U05 60 120 4 3 T Z P S W
management..

13 |ICC024036w Heterogeneous processes in 4 K2Aic_W03 K2Aic_W05 K2Aic_W06 60 180 6 2,6 T E S
chemical,food and pharmaceutical %
industry

14 |1CC024036l Heterogeneous processes in 3 K2Aic_U01 K2Aic_U02 K2Aic_U06 K2Aic_U07 45 90 3 2,1 T z P S
chemical,food and pharmaceutical w
industry..

15 [1CC024036¢ Heterogeneous processes in 1 K2Aic_U01 K2Aic_U02 K2Aic_U06 K2Aic_U07 15 60 2 0,7 T z P S
chemical,food and pharmaceutical w
industry.

16 |1CC024036p Heterogeneous processes in 1 K2Aic_U01 K2Aic_U02 K2Aic_U06 K2Aic_U07 15 60 2 0,75 T z P S
chemical,food and pharmaceutical w
industry...

Razem 11 1 10 [11] 6 585 | 1440 | 48 27,3 3 31




CNE Chemical Nano-engineering ( min.

64 pkt ECTS)

L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow semestralna liczba godzin Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kurséw
kursow oznaczy¢ symbolem GK) w ¢ | p s ZZU | CNPS | Iaczna | zajgé kursu/ | zaliczenia | ogélno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK grupy uczelniany | praktycznym
1 |1CC025011w Nano-Electrochemistry 15 K2Aic_W03 15 30 1 0,65 E S W
2 |1CC025011c Nano-Electrochemistry 9 K2Aic_U07 9 30 1 0,42 Y4 P S W
3 |1CC025011l Nano-Electrochemistry 3 K2Aic U07 K2Aic K04 3 30 1 0,14 Z P S W
4 1CC025012w Solid State Chemistry and Nanomaterials | 36 Kaaic_wol 36 90 3 1,56 E S W
S 1CC025012c Solid State Chemistry and Nanomaterials 21 K2Aic_U01 K2Alc_U04 21 90 3 0,98 z P S W
® liccozs0121  |Solid State Chemistry and Nanomaterials 6 K2Aic_U01 K2Alc_U04 6 | 30 | 1 |oz2 z P s |w
7 |1CC025014w Basic Quantum Chemistry Modelling 15 K2Aic_ W03 15 30 1 0,65 Y4 S W
8 |1CC025014c Basic Quantum Chemistry Modelling 9 K2Aic U04 9 30 1 0,45 Z P S W
9 |1CC025014I Basic Quantum Chemistry Modelling 3 K2Aic_U04 3 30 1 0,14 Y4 P S W
10 1CC025016wW Thermo_dynamlcs of Materials- 15 K2Aic_Wo01 15 20 1 0,65 7 s W
Interactions and Surface Forces
11 1CC025016¢ Thermo'dynamlcs of Materials- 9 K2Aic_U02 9 30 1 0,42 7 p s W
Interactions and Surface Forces
12 1CC025016] Thermo'dynamlcs of Materials- 3 K2Aic_U02 3 30 1 0.14 7 p s W
Interactions and Surface Forces
13 [ICC025001w Structure and Crystallography of solids 30 K2Aic W01 30 60 2 1,3 Z S W
14 [ICC025001¢c Structure and Crystallography of solids 15 K2Aic_U02 15 30 1 0,7 Y4 P S W
15 1CC025002w Syn'the5|§ and Fabrication of Nano- 30 K2Aic_Wo01 20 60 2 13 E s W
engineering Systems
16 1CC025002¢ Syn'the5|§ and Fabrication of Nano- 15 K2Aic_U02 15 30 1 07 7 p s W
engineering Systems
17 |1CC025003w Fabrication of Smart Polymers 30 K2Aic W01 K2Aic W06 30 60 2 1,3 Z S W
18 [ICC025003I Fabrication of Smart Polymers 15 K2Aic_U01 K2Aic_U06 K2Aic_U07 15 30 1 0,7 Y4 P S W
19 |1CC025004w Engineering of Nano-machines 15 K2Aic_Wo1 15 30 1 0,65 Z S W
20 [1CC025004s Engineering of Nano-machines 15 K2Aic_U04 K2Aic_U05 K2Aic K01 15 30 1 0,7 Y4 P S W
21 |ICC025005w Bio-photonics 15 K2Aic_Wo1 15 30 1 0,65 E S w
22 |1CC025005s Bio-photonics 15 K2Aic_U05 K2Aic_U07 15 30 1 0,7 z P S w
23 [1CC025006wW Biomaterials-Biomedical Devices 15 K2Aic_ W01 15 60 2 0,65 Z S W
24 |1CC025006s Biomaterials-Biomedical Devices 15 K2Aic_U06 15 30 1 0,7 Z P S W
25 1CCO25007w Nanost_ructures |_n In_dustnal and 30 K2Aic_W03 K2Aic_WO06 20 60 2 13 7 s W
Numerical Applications
26 1CC025007¢ Nanost_ructures |_n In_dustnal and 30 K2Aic_U03 20 60 2 14 7 p s W
Numerical Applications
27 1CC025007s Nanost_ructures |_n In_dustnal and 30 K2Aic_U03 20 30 1 14 7 p s W
Numerical Applications
28 [1CC025021w Nanoscale Synthesis Methods 24 K2Aic_Wo01 24 60 2 1,04 E S W
29 |[1CC025021c Nanoscale Synthesis Methods 15 K2Aic U01 15 60 2 0,7 Y4 P S W
30 [ICC0250211 Nanoscale Synthesis Methods 6 K2Aic_U01 6 30 1 0,28 Z P S W
31 1CC025022w Macro_molecular and Supramolecular 24 K2Aic_W01 24 60 2 1,04 7 s W
Chemistry
32 1CC025022¢ Macro_molecular and Supramolecular 15 K2Aic_U07 15 60 2 07 7 p s W
Chemistry
33 1CC025022] Macro_molecular and Supramolecular 6 K2Aic_U07 K2Aic_K04 6 20 1 0.28 z P s W
Chemistry
34 1CC025023w Characterization of Nano-engineering 24 K2aic_W02 24 60 2 1,04 E s W
Systems
35 1CC025023¢ Characterization of Nano-engineering 18 K2Aic_U03 18 60 2 0,84 7 p s W
Systems
36 1CC025023 (s:;lszirezirc]tsenzatlon of Nano-engineering 12 K2Aic_U03 K2Aic_K04 12 60 2 0,56 z P S W




37 1CC025024w Nanoscale Ene_rgy Te_cr_mology,Nano- 24 K2Aic_Wo1 K2Aic_W05 24 60 2 104 z S W
sensors and Microfluidics
38 1CC025024c¢ Nanoscale Ene_rgy Te_cr_mology,Nano- 15 K2Aic_U04 K2Aic_U06 15 60 2 07 z P S W
sensors and Microfluidics
39 1CC0250241 Nanoscale Ene_rgy Te_cr_mology,Nano- 6 K2Aic_U04 K2Aic_U06 K2Aic_KO04 6 30 1 0.28 z P S W
sensors and Microfluidics
40 |1CC025009¢c Nano-engineering Seminar + Project 18 K2Aic U08 K2Aic U09 K2Aic K01 K2Aic K06 18 60 2 0,84 Z P S W
41 [1CC025009s Nano-engineering Seminar + Project 30 K2Aic_U08 K2Aic_U09 K2Aic_KO01 K2Aic_KO06 30 60 2 14 Y4 P S W
42 |1CC025009p Nano-engineering Seminar + Project 18 K2Aic U08 K2Aic U09 K2Aic K01 K2Aic K06 18 60 2 0,9 Y4 P S W
Razem 342 | 189 | 60 | 18 | 105 714 | 1920 64 | 32,27 5 38
4.2.4.2 Blok Przedmioty specjalnosciowe wybieralne
IPCi PPC
L.p. | Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe Tygodniowa liczba godzin Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma | Sposéb Kurs/grupa kurséw
kurséw kursow oznaczy¢ symbolem GK) ECTS kursu/ | zaliczenia
w ¢ I [ p| s ZZU | CNPS |laczna | zajeé grupy ogolno- | ocharakterze | rodzaj | typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
1 Kurs wybieralny 2 K2Aic_W06 30 60 2 1,3 T z S} W
1 |1CC020012w Zarzadzanie firma w oparciu o relacyjne 2 30 60 2 1,3 T z S w
bazy danych
2 |1CC020013w Procesy petrochemiczne 2 30 60 2 1,3 T z S W
3 |1CC020015w Materiaty wykorzystywane w procesachi| 2 30 60 2 1,3 T z S w
operaciach chemicznvch
4 |1CC020014w Termodynamika statystyczna w 2 30 60 2 1,3 T z S W
modelowaniu molekularnym
Razem 2 0 0]J]0] O 30 60 2 13 0
ACN
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow Tygodniowa liczba godzin Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposéb Kurs/grupa kurséw
kursow oznaczy¢ symbolem GK) w B | p | s ZZU | CNPS | taczna | zaje¢ | kursu/ | zaliczenia [ ogolno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK grupy uczelniany | praktycznym
1 Elective course | 2 K2Aic_W06 30 60 2 13 T y4 S Wi
CHCO020054w  |Fundamentals of physical chemistry S w
BTC020013w Molecular biology S W
TCC020024w Basic unit processes in chemical S W
technology
2 Elective course |1 2 K2Aic_W06 30 60 2 1,3 T Z S W
1CC020009wW Materials used in chemical unit operation S W
1CC020010w Microwaves and other advanced thermal S W
technologies in chemical engineering
1CC020011w New concepts and solutions in chemical S W
engineering
1CC020008w Statistical thermodynamics in molecular S w
modeling
Razem 4 0 [ 0 0 0 0 60 120 4 2,6 0




CNE

L.p. | Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/grupy kursow (grupg semestralna liczba godzin Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma | Sposéb Kurs/grupa kurséw
kursow kursow oznaczy¢ symbolem GK) w ¢ | p| s ZZU | CNPS |taczna | zaje¢ | kursu/ | zaliczenia | ogdlno- | ocharakterze | rodzaj | typ
BK grupy uczelniany | praktycznym
1 BLOK: Option A Chemistry( do 2 | 15 6 45 150 5 2,02
wyboru)
1CC025025w NMR of Nanosystems 24 K2Aic_W01 K2Aic_W05 24 60 2 1,04 Z S W
1CC025025¢ NMR of Nanosystems 15 K2Aic_U06 15 60 2 0,7 z p S W
1CC025025I| NMR of Nanosystems 6 K2Aic_U06 K2Aic_U08 K2Aic_K04 6 30 1 0,28 Z P S W
1CC025026w St_ructural and Function Properties of 21 K2Aic_Wo01 K2Aic_W05 o4 60 2 104 7 S W
Biopolymers
1CC025026¢ St_ructural and Function Properties of 15 K2Aic_U07 15 60 2 07 7 p s W
Biopolymers
1CC0250261 St_ructural and Function Properties of 6 K2Aic_U07 K2Aic_U08 K2Aic_K04 6 30 1 0.28 7 P S W
Biopolymers
2 BLOK: Option B Modelling( do o | 15 6 45 150 5 2,02
wyboru)
1CC025027w Nanospalg Structural Transformations 21 K2Aic_W03 24 60 2 1,04 7 s W
and Kinetics
1CC025027¢ Nanos'calej Structural Transformations 15 K2Aic_U06 15 60 2 07 7 p s W
and Kinetics
1CC0250271 Nanos'calej Structural Transformations 6 K2Aic_U02 K2Aic_U06 6 30 1 0.28 7 p s W
and Kinetics
1CC025028w Probabl'llty and_ Statistical Methods for 21 K2Aic_W03 24 60 2 1,04 7 s W
Modelling Engineers
1CC025028¢ Probabl'llty and_ Statistical Methods for 15 K2Aic_U02 15 60 2 07 7 p s W
Modelling Engineers
1CC025028! Probabl'llty and_ Statistical Methods for 6 K2Aic_U02 K2Aic_U04 6 30 1 0.28 7 p s W
Modelling Engineers
Razem 24 | 15 6 |0 O 45 150 5 2,02 3
Razem dla blokéw specjalnosciowych Laczna liczba godzin chzn'a liczba chzt.la liczba Laczna liczba pkt. Liczba pantéw
- godzin ZZU godzin CNPS ECTS ECTS zajg¢ BK
w ¢ | p| s
IPC| 20 0 19]15]0 660 1650 55 30,05
PPC| 15 0 18 |11]| O 660 1650 55 30,6
ACN| 15 1 10 11| 6 645 1560 52 29,9
CNE| 366 | 204 | 66 | 18 | 105 759 2070 69 34,29




4.3 Blok praktyk
nie dotyczy

4.4 Blok ,,praca dyplomowa”

IPC i PPC |
Typ pracy dyplomowej magisterska
Liczba Semestrow pracy Liczba punktow ECTS Tytul kursu Kod
dyplomowej
1 4 Praca dyplomowa | CHC020002 I
1 10 Praca dyplomowa Il CHC020010 I
1 10 Sem. dyplomowe +praca magisterska +przyg. do egz. dypl. 1CC023001s

Praca dyplomowa studiéw Il stopnia (magisterskich) powinna mie¢ znamiona pracy naukowej, doswiadczalnej lub teoretycznej, o charakterze podstawowym lub praktycznym. Praca
powinna zaowocowa¢ nowymi wynikami oryginalnych badan lub rozwiazan techniczno-technologicznych, a jej prezentacja w formie pisemnego dzieta powinna zawiera¢ uzyskane wyniki
oraz pokaza¢ wiedze¢ i umiejetnosei autora, w tym migdzy innymi: (1) zdolnosé¢ do formutowania celéw i probleméw badawczych; (2) umiejetno$é¢ korzystania z literatury i innych zrodet
wiedzy; (3) umiejetnos$¢ planowania i przeprowadzania badan i innych dziatan prowadzacych do zrealizowania postawionych celow i probleméw; (4) umieje¢tno$é poprawnej interpretacji
wynikow; (5) umiejetnos¢ postugiwania si¢ precyzyjnym i jasnym jezykiem oraz wlasciwego dobierania materiatow graficznych ilustrujacych przedstawiane zagadnienia

Liczba punktéw ECTS BK' 16,5
ACN |
Typ pracy dyplomowej magisterska
Liczba semestrow pracy Liczba punktow ECTS Tytut kursu Kod
dyplomowej

1 4 Graduate laboratory | CHC030009 |
1 10 Graduate laboratory Il CHC030008 |
1 10 Graduate seminar + Master Thesis 1CC024001s

Praca dyplomowa studiow Il stopnia (magisterskich) powinna mie¢ znamiona pracy naukowej, doswiadczalnej lub teoretycznej, o charakterze podstawowym lub praktycznym. Pracal
powinna zaowocowa¢ nowymi wynikami oryginalnych badan lub rozwigzan techniczno-technologicznych, a jej prezentacja w formie pisemnego dzieta powinna zawiera¢ uzyskane wyniki
oraz pokaza¢ wiedze¢ i umiejetnosci autora, w tym migdzy innymi: (1) zdolno$¢ do formutowania celow i probleméw badawczych; (2) umiejetnosé korzystania z literatury i innych zrodet
wiedzy; (3) umiejetnos$¢ planowania i przeprowadzania badan i innych dziatan prowadzacych do zrealizowania postawionych celow i problemow; (4) umiejetno$é poprawnej interpretacji
wynikow; (5) umiejetnos¢ postugiwania si¢ precyzyjnym i jasnym jezykiem oraz wlasciwego dobierania materiatow graficznych ilustrujacych przedstawiane zagadnienia

16,5

Liczba punktéw ECTS BK*




CNE ]

Typ pracy dyplomowej magisterska
Liczba semestrow. pracy Liczba punktéow ECTS Tytul kursu Kod
dyplomowej
1 30 Maser Thesis 1CC0250301

Praca dyplomowa studiow Il stopnia (magisterskich) powinna mie¢ znamiona pracy naukowej, doswiadczalnej lub teoretycznej, o charakterze podstawowym lub praktycznym. Pracaj
powinna zaowocowac¢ nowymi wynikami oryginalnych badan lub rozwigzan techniczno-technologicznych, a jej prezentacja w formie pisemnego dzieta powinna zawiera¢ uzyskane wyniki
oraz pokaza¢ wiedze¢ i umiejetnosci autora, w tym migdzy innymi: (1) zdolno$¢ do formutowania celéw i probleméw badawczych; (2) umiejetnosé korzystania z literatury i innych zrodet
wiedzy; (3) umiejetnos¢ planowania i przeprowadzania badan i innych dziatan prowadzacych do zrealizowania postawionych celow i problemow; (4) umiej¢tno$é poprawnej interpretacji
wynikow; (5) umiejetnos¢ postugiwania si¢ precyzyjnym i jasnym jezykiem oraz wlasciwego dobierania materiatow graficznych ilustrujacych przedstawiane zagadnienia

Liczba punktéw ECTS BK" 18

5. Sposoby weryfikacji zakladanych efektéw uczenia si¢

Typ zajeé Sposoby weryfikacji zakladanych efektéw uczenia sie
wyktad egzamin, kolokwium, e-egzamin

¢wiczenia test, kolokwium, e-kolokwium

laboratorium wejécidwka, sprawozdanie z laboratorium

projekt ocena projektu

udziat w dyskusji, prezentacja tematu, prezentacja
multimedialna
praca dyplomowa przygotowana praca magisterska

seminarium




6. Zakres egzaminu dyplomowego

IPC PPC ACN
1. Procesy chemiczne - zagadnienia zwiazane z inzynierig i technologig produktu
2. Aparatura procesowa - wybrane zagadnienia.
3. Inzynieria chemiczna - wybrane zagadnienia.

CNE

. Podstawowe metody pomiarowe w skali nano - idea, zakres stosowalnos$ci, podstawowa aparatura, opis szybkosci.

. Podstawowe mechanizmy syntezy nanosystemow - idea, zakres stosowalnosci, podstawowa aparatura, opis szybkosci.
. Technologie z wykorzystaniem nanoczgstek.

. Adsorpcja w materiatach nanoporowatych.

. Podstawy kwantowe i statystyczne nano-wtasciwosci.

. Modelowanie mechanizméw mikroskopowych.

. Modelowanie materialow na potrzeby nanoinzynierii.

. Perspektywy wykorzystania nanomaszyn w medycynie.

00 3O L K~ W —

7. Wymagania dotyczace terminu zaliczenia okreslonych kurséw/grup kurséow lub wszystkich kursow w poszczegdlnych blokach

Kazdy kurs z planu studiéw powinien by¢ zaliczony zgodnie z planem studiéw. W przypadku konieczno$ci powtarzania kursu, kurs ten powinien by¢ zaliczony
w najblizszym semestrze, w ktdorych jest oferowany.



8. Plan studiéw (zalgcznik nr 3 )

Zaopiniowane przez wlasciwy organ uchwatodawcezy samorzadu studenckiego:
Samorzad studencki aprebuje Program studiow I stopnia na kierunku Inzynieria chemiczna i procesowa

Data Imie, nazwisko i podpis przedgéticiela studentdw

Data




1)BK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaj¢¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow

2)Tradycyjna — T, zdalna— Z
3)Egzamin — E, zaliczenie na ocen¢ — Z. W grupie kursow po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme¢ kursu koncowego (w, c, 1, s, p)

4)Kurs/ grupa kurséw Ogolnouczelniany — O
5)Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczb¢ punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

6)KO - ksztatcenia ogdlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy
7) W — wybieralny, Ob — obowigzkowy



Zal. nr 4 do ZW 13/2019

Zatacznik nr 3 do Programu studiow

PLAN STUDIOW

WYDZIAL: Chemiczny

KIERUNEK STUDIOW: Inzynieria chemiczna i procesowa
POZIOM KSZTALCENIA: studia drugiego stopnia (4 sem. magisterskie)
FORMA STUDIOW: stacjonarna

PROFIL: ogolnoakademicki

SPECJALNOSC: Inzynieria proceséw chemicznych

JEZYK PROWADZENIA STUDIOW: jezyk polski

Obowigzuje od roku akademickiego 2019/2020 ze zmianami wprowadzonymi Uchwala nr 292/24/2020-2024 Senatu Politechniki Wroctawskiej z dnia
7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwaty nr 743/32/2016-2020 Senatu PWr z dnia 16 maja 2019 r.




Semestr uzupelniajacy na studiach 4-semestralnych

Sem. Specjalnosci w j. angielskim CH, CIM, ICH, TCH BT
Godz. 26h /30 ECTS /2E 26 h/30 ECTS/ 2E 26 h /30 ECTS / 2E
26 | Elective course | 2w(2 ECTS) Bezpieczenstwo techniczne Bezpieczefstwo pracy i ergonomia
1w+ 11 (1 +1ECTS) 1w (1 ECTS)
25 Ochrona $rodowiska
24 | Chemical informatics Recykling materiatow 2w (2 ECTS)
23 |21 (2ECTS) 2w (2 ECTS) Analiza ekonomiczna chemicznego
procesu technologicznego 1w (1 ECTS)
22 | Environment protection 2w (2 ECTS) Metody badan materiatow Podstawy bioinformatyki
21 2w (2 ECTS) 2l (2 ECTS)
20 Introduction to materials science and Pomiary w aparaturze procesowej Biotechnologia E
19 |engineering 2w (2 ECTS) 2w + 21 (2+ 2 ECTS) 2w (3 ECTS)
18 | Technical safety 1w (3 ECTS) Mikrobiologia przemystowa
17 | Technical drawing 2l (2 ECTS) 2w (2 ECTS)
16 Podstawy technologii chemicznej Separacje i oczyszczanie bioproduktow
15 | Recycling of materials 2w (2 ECTS) 2w +2p (3+2) ECTS 2w+2l
14 (3+2) ECTS
13 | Biotechnology with introduction to industrial
12 | microbiology Podstawowe procesy jednostkowe w Inzynieria bioreaktorow E
11 |2w+1p (2 +1ECTS) technologii chemicznej 2w+2|
2w (3 ECTS) (3+2) ECTS
10 | Fundamentals of chemical technology Materiatoznawstwo
9 | 2w+2p (2+2 ECTS) E |2w(2ECTS)
8 Technologie informacyjne B Inzynieria chemiczna
7 21 (2ECTS) 2c+2l
6 Measurements in chemical equipment Grafika inzynierska (2+2) ECTS
5 |1w+21(2+2ECTS) 21 (2ECTS)
4 Podstawy inzynierii chemicznej Podstawy inzynierii chemicznej
3| Introduction to chemical engineering E |2W+2e 2w (3 ECTS)
2 2w + 1c (2 + 2 ETCS) (3 +3ETCS) Grafika inzynierska
1 21 (2 ECTS)
Sem. complementary engineering / uzupelniajacy inzynierski

Elective course I: CHC020054w Fundamentals of physical chemistry 2w 2ECTS,
BTC020013w Molecular biology 2w 2ECTS
TCC020024w Basic unit processes in chemical technology 2w 2ECTS

2019/2020



STUDIA Il STOPNIA, MAGISTERSKIE (3 sem)
KIERUNEK: INZYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

Specjalnoé¢: Inzynieria proceséw chemicznych (dr hab. inz. Anna Witek-Krowiak)

Kursy wybieralne kierunkowe:
Zarzadzanie firmg w oparciu o relacyjne bazy

danych 2w (2 ECTS)

Procesy petrochemiczne 2w (2 ECTS)

2019/2020

Termodynamika statystyczna w modelowaniu
molekularnym 2w (2 ECTS)

Materiaty wykorzystywane w procesach i
operacjach chemicznych 2w (2 ECTS)

Sem. | 1 i
Godz. 25h/30ECTS/3E 24 h/30ECTS/2E 23 h/ 30ECTS
26
25 Programy symulacji i projektowania instalacji
chemicznych Krystalizacja
24 | 2| (3ECTS) 1w + 21 (1+2) ECTS
23 | Ekonomika procesow Kurs wybieralny
22 1w+ 21 (2 +2) ECTS 2w (2 ECTS)
21 Dynamika systemow i sterowanie Zarzadzanie projektami przemyslowymi
20 Aparatura procesowa 1w + 3l (2+3) ECTS 1w+ 2c (2+3) ECTS
19 2w+ 2p (3 +2) ECTS
Procesy suszarnicze
18 1w 1ECTS
Symulacje procesow metodg CFD Odnawialne zrédta energii
17 1w + 2l (2+ 3) ECTS 1w 1ECTS
Metody optymalizacji procesow Nanoinzynieria chemiczna
16 1w + 2| (2+2) ECTS 1w 1ECTS
15 Praca dyplomowa Il
14 Materiaty funkcjonalne 141 (10 ECTS)
13 | Inzynieria przemystowych procesow 2w+2l (2+2) ECTS
12 | biotechnologicznych
1 2w + 2l (3+2) ECTS
10 InZynieria i technologia produktu
9 Technologie w inzynierii Srodowiska 1w +21 (2 +2) ECTS
3 2w + 2p (3+2) ECTS
7 Techniki membranowe rozdzielania mieszanin
6 1w+1p (2+2) ECTS
Nowoczesne procesy przemystowe BAT Jezyk obey (B2+)  1c (1 ECTS)
5 1w 1ECTS
Gospodarka odpadami przemystowymi Praca dyplomowa |
4 1w (1 ECTS) 41 (4 ECTS)
3
2 Jezyk obcy (A1/A2)
3c (2 ECTS) Sem. dyplomowe 1s + praca magisterska +
1 przyg. do egz. dypl. (10 ECTS)
Sem. | 1 i

Dopuszczalny deficyt punktow ECTS po kazdym semestrze: 15 ECTS



1. Zestaw kursow i grup kurséw obowigzkowych i wybieralnych w ukladzie semestralnym

semestr 1 kursy obowiazkowe
laczna liczba punktow ECTS 30
Tygodniowa liczba . . Liczba pkt. Forma .
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kurséw oznaczyé godzin L pacael ECTS kursu/ | Sposéb UIET TR
L.p. p Symbol efektu uczenia sig¢ ) .
grupy kurséw symbolem GK) o | zaje¢ | grupy zaliczenia [ og6lno- | o charakterze dzai
w| ¢ p|s ZZU | CNPS |taczna BK Kurséw uczelniany | praktycznym rodzaj | typ
1 |TCC014006w |Bezpieczenstwo techniczne 1 K2Aic W13 15 30 1 0,65 T YA K Ob
2 |TCC014006 I Bezpieczenstwo techniczne. 1 K2Aic_U15 K2Aic_U16 15 30 1 0,7 T Y4 P K Ob
3 |ELR021225w  |Metody badan materiatlow 2 K2Aic W15 30 60 2 13 T E K [Ob
4 [1CC013008w Pomiary w aparaturze procesowej 2 K2Aic W09 30 60 2 13 T Y4 K Ob
5 [ICC013008I Pomiary w aparaturze procesowe;j. 2 K2Aic U15 K2Aic U17 30 60 2 1,4 T Y4 P K Ob
6 |TCC015003w |Podstawowe procesy jednostkowe w technologii 2 K2Aic_W09 K2Aic_W14 K2Aic_W15 30 90 3 13 T E K Ob
chemicznej K2Aic W17
7 |TCCO014001w |Podstawy technologii chemicznej 2 K2Aic_W08 K2Aic_W11 K2Aic_W14 30 90 3 1,3 T z K | Ob
8 |TCCO014001p Podstawy technologii chemiczne;j. 2 K2Aic_U11 K2Aic_U17 K2Aic_U18 30 60 2 15 T z P K Ob
9 |IMC012002w |Materialoznawstwo 2 K2Aic W15 30 60 2 1,3 T VA K Ob
10 [TIC011003 I Technologie informacyjne B 2 K2Aic U14 30 60 2 14 T y4 P KO | Ob
11 [GFC011001 1 |Grafika inzynierska 2 K2Aic U12 K2Aic U13 30 60 2 14 T Z P K [Ob
12 |1CC013003w Podstawy inzynierii chemicznej 2 K2Aic_W08 K2Aic_W10 K2Aic_W11 30 90 3 1,3 T z K Ob.
K2Aic_W12
13 [ICC013003c Podstawy inzynierii chemicznej. 2 K2Aic U1l 30 90 3 1,4 T VA P K Ob
14 |IMCO015016w  [Recykling materiatow 2 K2Aic_ W16 30 60 2 1,3 T y4 K Ob
Razem 1512171210 390 | 900 30 | 17,55 2
kursy wybieralne
taczna liczba punktow ECTS 0
Tygodniowa liczba . . Liczba pkt. Forma .
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursoéw (grupe kurséw oznaczyé¢ godzin L By ECTS kursu/ | Sposob MUz ST
L.p. a Symbol efektu uczenia sig¢ ) .
grupy kurséw symbolem GK) | 270 | enes i zaje¢ | Orupy |zaliczenia| ogélno- | o charakterze dzai
wile Pls acznal gy | kursow uczelniany | prakycznym | 0973 | P
Razem 0ojojJofo]oO 0 0 0 0

Laczna liczba godzin | Laczna liczba godzin |Laczna liczba godzin| Laczna liczba pkt. | Liczba punktow
wl¢| |l p|s ZZU CNPS ECTS ECTS zajg¢ BK
5{2[7]2]0 390 900 30 17,55




semestr 2 kursy obowiazkowe
taczna liczba punktow ECTS 28
Tygodniowa liczba . . Liczba pkt. Forma .
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kurséw oznaczyé¢ godzin L Al ECTS kursu/ | Sposob LT
Lp p Symbol efektu uczenia si¢ - ) .
grupy kurséw symbolem GK) o | zaje¢ | Orupy |zaliczenia| ogélno- | o charakterze dzai
w| ¢ p|s ZZU | CNPS |taczna BK Kurséw uczelniany | praktycznym rodzaj | typ
1 [1CC023047I Programy symulacji i projektowania instalacji 2 K2Aic_U04 30 90 3 14 T z P S W
chemicznych
2 [ICC023046w Ekonomika proceséw 1 K2Aic W02 K2Aic K06 15 60 2 0,65 T Y4 S W
3 [1CC023046I Ekonomika proces6w. 2 K2Aic U03 K2Aic K06 30 60 2 14 T Z P S w
4 |ICC023018w  |Aparatura procesowa 2 K2Aic_Wo01 30 90 3 1,3 T E s |W
5 |1CC023018p Aparatura procesowa.. 2 K2Aic_U01 30 60 2 15 T z P S w
6 [ICC023048w | Metody optymalizacji procesow 1 K2Aic_W03 15 60 2 0,65 T YA PD |Ob
7 [1CC023048I Metody optymalizacji procesow. 2 K2Aic U02 30 60 2 1,4 T y4 P S W
8 1CC023058w Ir.liynieria pr;emyslowych procesow 2 K2Aic_W05 K2Aic_W06 30 90 3 13 T E w
biotechnologicznych
9 |ICC023058I Ir_12yn1er1a pr?emyslowych procesow 2 K2Aic_U06 K2Aic_K04 30 60 2 14 T 7 P s W
biotechnologicznych.
10 [ICC023059w Technologie w inzynierii Srodowiska 2 K2Aic W01 30 90 3 1,3 T E S W
11 [ICC023059p Technologie w inzynierii $rodowiska. 2 K2Aic U07 30 60 2 15 T VA P S W
12 |1CC023060w Nowoczesne procesy przemystowe BAT 1 K2Aic_W04 15 30 1 0,65 T y4 S W
13 [ICC023061w Gospodarka odpadami przemystowymi 1 K2Aic W04 15 30 1 0,65 T VA S W
10/0]18]1410 330 | 840 28 15,1 T 3
kursy wybieralne
taczna liczba punktow ECTS 2
Tygodniowa liczba . . Liczba pkt. Forma p
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe¢ kursow oznaczy¢ godzin L Rl e ECTS kursu/ | Spos6b LU
L.p. A Symbol efektu uczenia si¢ - - B
grupy kursow symbolem GK) ¢l zaje¢ | Orupy |zaliczenia| ogélno- | o charakterze .
w| ¢ p|s ZZU | CNPS |taczna BK | kurséw uczelniany | praktycznym rodzaj | typ
1 Jezyk obey 11 (A1/A2) 3 K2Aic_U08 45 60 2 18 y4 P KO | W
Razem 0[3]0f0]O0 45 60 2 18

Laczna liczba godzin

wl|é| 1| p|s

Laczna liczba godzin
ZzZU

Laczna liczba godzin
CNPS

Laczna liczba pkt.
ECIS

Liczba punktow
ECTS zaje¢ BK

10/3]181410

375

900

30

16,9




semestr 3

kursy obowigzkowe

taczna liczba punktow ECTS 25
Tygodniowa liczba . . Liczba pkt. Forma .
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kurséw oznaczyé¢ godzin L Al ECTS kursu/ | Sposob LT
Lp p Symbol efektu uczenia si¢ - ) .
grupy kursow symbolem GK) 1 zaje¢ | Orupy |zaliczenia| ogélno- | o charakterze dzai
w| ¢ p|s ZZU | CNPS |taczna BK | kurséw uczelniany | praktycznym rodzaj | typ
1 [1CC023052w Krystalizacja 1 K2Aic W01 15 30 1 0,65 T Y4 S W
2 [1CC0230521 Krystalizacja. 2 K2Aic U01 K2Aic K04 30 60 2 14 T Y4 P S W
3 |ICC023053w | Dynamika systeméw i sterowanie 1 K2Aic_W03 15 | 60 2 0,65 T z S | W
4 [1CC023053I Dynamika systeméw i sterowanie. 3 K2Aic U02 45 90 3 2,1 T Y4 P S W
5 |1CC023054w Symulacije procesow metoda CFD 1 K2Aic W03 15 60 2 0,65 T E S W
6 |1CC0230541 Symulacje proceséw metoda CFD. 2 K2Aic_U04 30 90 3 14 T Y4 P S W
7 |ICC023062w  |Materialy funkcjonalne 2 K2Aic W01 30 60 2 13 T E S w
8 |1CC0230621 Materialy funkcjonalne. 2 K2Aic_Uo01 K2Aic_K04 30 60 2 14 T Y4 P S W
9 |1CC023063w Inzynieria i technologia produktu 1 K2Aic W04 15 60 2 0,65 T YA S W
10 (ICC023063I Inzynieria i technologia produktu. 2 K2Aic_U01 K2Aic_K04 30 60 2 1,4 T z P S |w
11 |1CC023064w Techniki membranowe rozdzielania mieszanin 1 K2Aic_ W01 15 60 2 0,65 T y4 S W
12 |1CC023064p Techniki membranowe rozdzielania mieszanin. 1 K2Aic U03 K2Aic U05 15 60 2 0,75 T Y4 P S W
Razem 7]10J11]11]0 285 | 750 25 13 2
kursy wybieralne
taczna liczba punktéw ECTS 5
Tygodniowa liczba . . Liczba pkt. Forma .
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kurséw oznaczy¢ godzin . Pt e ECTS kursu/ | Sposéb T g Y
L.p. . Symbol efektu uczenia si¢ - - B —
grupy kursow symbolem GK) ¢l zaje¢ | Orupy |zaliczenia| ogélno- | o charakterze .
w| ¢ p|s ZZU | CNPS |taczna BK | kurséw uczelniany | praktycznym rodzaj | typ
1 |[CHC020002I Praca dyplomowa | 4 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_K07 K2Aic_K08 60 120 4 3 T z P K wW
2 Jezyk obey I (B2+) 1 K2Aic_U08 K2Aic_U10 15 30 1 0,6 z P KO |wW
Razem 0j1{4]0]0 75 150 5 3,6
Yaczna liczba godzin | Laczna liczba godzin |Laczna liczba godzin| Laczna liczba pkt. | Liczba punktow
w|¢é| | pls ZZU CNPS ECTS ECTS zajg¢ BK
7]11]15]1]0 360 900 30 16,6




semestr 4 kursy obowiazkowe
taczna liczba punktow ECTS 8
Tygodniowa liczba . . Liczba pkt. Forma .
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kurséw oznaczyé¢ godzin L Al ECTS kursu/ | Sposob LT
L.p. p Symbol efektu uczenia si¢ - ) .
grupy kursow symbolem GK) 1 zaje¢ | Orupy |zaliczenia| ogélno- | o charakterze dzai
w| ¢ p|s ZZU | CNPS |taczna BK Kurséw uczelniany | praktycznym rodzaj | typ
1 [ICC023070w  |Zarzadzanie projektami przemystowymi 1 K2Aic_Wo04 K2Aic_Wo07 K2Aic_K02 K2Aic_K03 15 60 2 0,65 T z KO |[Ob
2 |1CC023070c Zarzadzanie projektami przemystowymi. 2 K2Aic_U05 K2Aic_U08 K2Aic_K02 K2Aic_K03 30 90 3 14 T Y4 P KO |Ob
3 |1CC023065w Procesy suszarnicze 1 K2Aic W01 15 30 1 0,65 T YA S W
4 ]1CC023066w Odnawialne zrodfa energii 1 K2Aic_W01 K2Aic_W06 15 30 1 0,65 T Y4 S W
5 [ICC023067w __ |Nanoinzynieria chemiczna 1 K2Aic W01 K2Aic W06 15 30 1 0,65 T Z PD_[Ob
Razem 41210]071]0 90 240 8 4 0
kursy wybieralne
taczna liczba punktow ECTS 22
Tygodniowa liczba . . Liczba pkt. Forma .
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kurséw oznaczy¢ godzin . Pt e ECTS kursu/ | Sposéb T g Y
L.p. A Symbol efektu uczenia si¢ - - B —
grupy kursow symbolem GK) . zaje¢ | Orupy |zaliczenia| ogélno- | o charakterze .
wlé| 1| p]s ZZU | CNPS |faczna BK Kurséw uczehiany | praktycznym rodzaj | typ
1 Kurs wybieralny 2 K2Aic_W06 30 60 2 1,3 T y4 S W
2 |CHC0200101 |Praca dyplomowa Il 14 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_K07 K2Aic_KO08 210 | 300 10 8,5 T z P K w
3 |ICC023001s Sem. dyplomowe +praca magisterska +przyg. do egz. 1 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_K01 K2Aic_K05 15 300 10 5 T z P K W
dypl. K2Aic_K06
Razem 2]10]14]0 )1 255 | 660 22 14,8
Yaczna liczba godzin | Eaczna liczba godzin |Laczna liczba godzin| Laczna liczba pkt. | Liczba punktow
wlée[ | p]s 77U CNPS ECTS ECTS zajg¢ BK
612]14[0]1 345 900 30 18,8
Lista kursoéw specjalno$ciowych wybieralnych
L.p.| Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kurséw oznaczy¢ Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia sig Liczba godzin| Liczba pkt. Forma | Sposob Kurs/grupa kurséw
grupy kurséw symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wl¢| 1T ]p]s ZZU | CNPS [faczna| zajeé grupy ogo6lno- o charakterze | rodzaj | typ
BK | kursow uczelniany | Praktycznym
1 |1CC020012w Zarzadzanie firmg w oparciu o relacyjne bazy danych 2 K2Aic_W06 30 60 2 1,3 T Y4 S W
2 |1CC020013w Procesy petrochemiczne 2 K2Aic_ W06 30 60 2 13 T Y4 S W
3 |1CC020015w Materiaty wykorzystywane w procesach i operacjach 2 K2Aic_W06 30 60 2 13 T z S w
chemicznych
4 |ICC020014w  |Termodynamika statystyczna w modelowaniu 2 K2Aic_W06 30 60 2 1,3 T z S W
molekularnym




2. Zestaw egzaminow w ukladzie semestralnym

Kod kursu/grupy kursow Nazwy kursow/ grup kurséw konczacych sie egzaminem Semestr
ELR021225w Metody badan materiatow 1
TCC015003w Podstawowe procesy jednostkowe w technologii chemicznej 1
ICC023018w Aparatura procesowa 2
ICC023058w InZynieria przemystowych procesow biotechnologicznych 2
ICC023059w Technologie w inzynierii Srodowiska 2
ICC023054w Symulacje proceséw metodg CFD 3
ICC023062w Materiaty funkcjonalne 3




3. Liczby dopuszczalnego deficytu punktow ECTS po poszczegélnych semestrach

Semestr Dopuszczainy deficyt punktow ECTS po semestrze
1 15
2 15
3 15
4

Opinia wlasciwego organu Samorzadu Studenckiego
Samorzad studencki aprobuje Plan studiéw II stopnia na kierunku Inzynieria chemiczna i procesowa, na specjalnosci

Inzynieria proceséw chemicznych




1)BK —liczba punktéow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
2)Tradycyjna — T, zdalna — Z
3)Egzamin — E, zaliczenie na ocen¢ — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme¢ kursu koncowego (w, c, 1, s, p)

4)Kurs/ grupa kurséw Ogolnouczelniany — O

5)Kurs/ grupa kurséow Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczbg punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6)KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy

7) W — wybieralny, Ob — obowigzkowy



Zal. nr 4 do ZW 13/2019

Zatacznik nr 3 do Programu studiow

PLAN STUDIOW

WYDZIAL: Chemiczny

KIERUNEK STUDIOW: Inzynieria chemiczna i procesowa
POZIOM KSZTALCENIA: studia drugiego stopnia (4 sem. magisterskie)
FORMA STUDIOW: stacjonarna

PROFIL: ogolnoakademicki

SPECJALNOSC: Projektowanie proceséw chemicznych
JEZYK PROWADZENIA STUDIOW: jezyk polski

Obowigzuje od roku akademickiego 2019/2020 ze zmianami wprowadzonymi Uchwala nr 292/24/2020-2024 Senatu Politechniki Wroctawskiej z dnia
7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwaty nr 743/32/2016-2020 Senatu PWr z dnia 16 maja 2019 r.



Semestr uzupelniajacy na studiach 4-semestralnych

Sem. Specjalnosci w j. angielskim CH, CIM, ICH, TCH BT
Godz. 26h /30 ECTS /2E 26 h/30 ECTS/ 2E 26 h /30 ECTS / 2E
26 | Elective course | 2w(2 ECTS) Bezpieczenstwo techniczne Bezpieczefstwo pracy i ergonomia
1w+ 11 (1 +1ECTS) 1w (1 ECTS)
25 Ochrona $rodowiska
24 | Chemical informatics Recykling materiatow 2w (2 ECTS)
23 |21 (2ECTS) 2w (2 ECTS) Analiza ekonomiczna chemicznego
procesu technologicznego 1w (1 ECTS)
22 | Environment protection 2w (2 ECTS) Metody badan materiatow Podstawy bioinformatyki
21 2w (2 ECTS) 2l (2 ECTS)
20 Introduction to materials science and Pomiary w aparaturze procesowej Biotechnologia E
19 |engineering 2w (2 ECTS) 2w + 21 (2+ 2 ECTS) 2w (3 ECTS)
18 | Technical safety 1w (3 ECTS) Mikrobiologia przemystowa
17 | Technical drawing 2l (2 ECTS) 2w (2 ECTS)
16 Podstawy technologii chemicznej Separacje i oczyszczanie bioproduktow
15 | Recycling of materials 2w (2 ECTS) 2w +2p (3+2) ECTS 2w+2l
14 (3+2) ECTS
13 | Biotechnology with introduction to industrial
12 | microbiology Podstawowe procesy jednostkowe w Inzynieria bioreaktorow E
11 |2w+1p (2 +1ECTS) technologii chemicznej 2w+2|
2w (3 ECTS) (3+2) ECTS
10 | Fundamentals of chemical technology Materiatoznawstwo
9 | 2w+2p (2+2 ECTS) E |2w(2ECTS)
8 Technologie informacyjne B Inzynieria chemiczna
7 21 (2ECTS) 2c+2l
6 Measurements in chemical equipment Grafika inzynierska (2+2) ECTS
5 |1w+21(2+2ECTS) 21 (2ECTS)
4 Podstawy inzynierii chemicznej Podstawy inzynierii chemicznej
3| Introduction to chemical engineering E |2W+2e 2w (3 ECTS)
2 2w + 1c (2 + 2 ETCS) (3 +3ETCS) Grafika inzynierska
1 21 (2 ECTS)
Sem. complementary engineering / uzupelniajacy inzynierski

Elective course I: CHC020054w Fundamentals of physical chemistry 2w 2ECTS,
BTC020013w Molecular biology 2w 2ECTS
TCC020024w Basic unit processes in chemical technology 2w 2ECTS

2019/2020



STUDIA Il STOPNIA, MAGISTERSKIE (3 sem)
KIERUNEK: INZYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

Specjalnos¢: Projektowanie procesow chemicznych (dr hab. inz. Lechostaw Krolikowski)

Kursy wybieralne:

Zarzadzanie firmg w oparciu o relacyjne bazy

danych 2w (2 ECTS)

Procesy petrochemiczne 2w (2 ECTS)

24h /30 ECTS/ 3E

23h /30 ECTS

Krystalizacja
1w+2l (1+2) ECTS

Kurs wybieralny
2w (2 ECTS)

Dynamika systemow i sterowanie
1w + 3l (2 + 3) ECTS

Zarzadzanie projektami przemystowymi
1w+2c (2+3) ECTS

Symulacje proceséw metodg CFD E

lw+2l (2+3)ECTS

Mikroinzynieria chemiczna
1w +2p (1 +2) ECTS

Inzynieria systemow procesowych E

1w + 2p (2 + 3) ECTS

Projektowanie instalacji przemystowych
1w+2p (1 + 3) ECTS

Zjawiska transportu w procesach E
chemicznych
2w+ 1p (2 + 1) ECTS

Jezyk obcy (B2+)  1c (1 ECTS)

Praca dyplomowa |
41 (4 ECTS)

Praca dyplomowa Il
141 (10 ECTS)

Sem. dyplomowe 1s + praca magisterska + przyg.

do egz. dypl. (10 ECTS)

Sem. '
Godz. 25h / 30ECTS / 2E
26
25 Programy symulacji i projektowania
instalacji chemicznych
24 |2l (3ECTS)
23 Ekonomika procesow
1w+ 2l (2 +2)ECTS
22
21
20 Aparatura procesowa
2w +2p (3+2)ECTS
19
18
17
16 Metody optymalizacji procesow
1w + 2l (2+2) ECTS
15
14
13 Modelowanie procesow
1w + 3l (2 + 3) ECTS
12
11
10
9 Procesy biotechnologiczne
1w+2l (1+2) ECTS
8
7
6 Konstrukcja aparatury procesowej
5 1w+2p (2+2) ECTS
4
3
2 Jezyk obcy (A1/A2)
3c (2ECTS)
1
Sem. |

2019/2020

Termodynamika statystyczna w modelowaniu
molekularnym 2w (2 ECTS)

Materiaty wykorzystywane w procesach i
operacjach chemicznych 2w (2 ECTS)



1. Zestaw kursow i grup kurséw obowiazkowych i wybieralnych w ukladzie semestralnym

semestr 1 |kursy obowiazkowe
taczna liczba punktow ECTS 30
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kursigrupa Kursow
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ godzin L godzin ECTS kursu/ | Sposéb
L.p. p Symbol efektu uczenia si¢ ' .
grupy kurséw symbolem GK) o | zaje¢ | grupy zaliczenia | ogélno- | o charakterze dzai
w| ¢ p|s ZZU | CNPS |laczna BK | kurséw uczelniany | prakiycznym rodzaj | typ
1 |TCC014006w |Bezpieczenstwo techniczne 1 K2Aic W13 15 30 1 0,65 T Z K Ob
2 |TCC014006 | Bezpieczenstwo techniczne. 1 K2Aic_U15 K2Aic_U16 15 30 1 0,7 T Y4 P K Ob
3 |ELR021225w _ |Metody badan materiatdw 2 K2Aic W15 30 60 2 13 T E K | Ob
4 [1CC013008w Pomiary w aparaturze procesowej 2 K2Aic W09 30 60 2 1,3 T Y4 K Ob
5 [1CC013008I Pomiary w aparaturze procesowej. 2 K2Aic U15 K2Aic U17 30 60 2 1,4 T Z P K Ob
6 |TCCO015003w [Podstawowe procesy jednostkowe w technologii 2 K2Aic_W09 K2Aic_W14 K2Aic_W15 30 90 3 13 T E K Ob
chemicznej K2Aic W17
7 |TCCO014001w |Podstawy technologii chemicznej 2 K2Aic_Wo08 K2Aic_W11 K2Aic_W14 30 90 3 1,3 T z K | Ob
8 |TCC014001p Podstawy technologii chemicznej. 2 K2Aic U1l K2Aic U17 K2Aic U18 30 60 2 15 T YA P K Ob
9 |[IMC012002w |Materialoznawstwo 2 K2Aic W15 30 60 2 1,3 T Z K Ob
10 [TIC011003 I Technologie informacyjne B 2 K2Aic U14 30 60 2 1,4 T Z P KO | Ob
11 |GFC011001 | |Grafika inzynierska 2 K2Aic U12 K2Aic U13 30 60 2 14 T z P K | Ob
12 |1CC013003w Podstawy inzynierii chemicznej 2 K2Aic_W08 K2Aic_W10 K2Aic_W11 K2Aic_W12 30 90 3 1,3 T z K Ob.
13 [ICC013003c Podstawy inzynierii chemiczne;. 2 K2Aic U1l 30 90 3 14 T YA P K Ob
14 [IMC015016w  |Recykling materialow 2 K2Aic W16 30 60 2 13 T z K | Ob
Razem 1512|7120 390 | 900 30 [17,55 2
kursy wybieralne
taczna liczba punktow ECTS 0
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kursigrupa kursow
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ godzin L godzin ECTS kursu/ | Sposéb
L.p. . Symbol efektu uczenia si¢ - ' .
grupy kursow symbolem GK) i zaje¢ | Orupy | zaliczenia| ogélno- | o charakterze .
wilé| I |{p]s ZZU | CNPS |faczna BK | kursow uczelniany | praktycznym rodzaj | typ
Razem 0jojojojo 0 0 0 0

Laczna liczba godzin

wlé¢|l I [ p]s

Laczna liczba godzin
ZZU

Laczna liczba
godzin CNPS

Laczna liczba pkt.
ECTS

Liczba punktow
ECTS zajeé BK

1512171210

390

900

30

17,55




semestr 2

kursy obowigzkowe

taczna liczba punktow ECTS 28
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kurs/grupa Kursow
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ godzin L godzin ECTS kursu/ | Sposéb
L.p p Symbol efektu uczenia si¢ . ' .
grupy kursow symbolem GK) : | zajeé | 9rupy | zaliczenia | ogélno- | o charakterze dzai
w| ¢ p|s ZZU | CNPS |laczna BK | kurséw uczelniany | prakiycznym rodzaj | typ
1 [1CC0230471 Programy symulacji i projektowania instalacji 2 K2Aic_U04 30 90 3 1,4 T z P S w
chemicznych
2 [ICC023046w Ekonomika proceséw 1 K2Aic W02 K2Aic K06 15 60 2 0,65 T Y4 S W
3 [1CC023046I Ekonomika proceséw. 2 K2Aic U03 K2Aic K06 30 60 2 14 T z P S W
4 (ICC023018w  |Aparatura procesowa 2 K2Aic_W01 30 | 90 3 1.3 T E s | W
5 |1CC023018p Aparatura procesowa.. 2 K2Aic_U01 30 60 2 15 T z P S W
6 [ICC023048w  |Metody optymalizacji procesow 1 K2Aic_W03 15 | 60 2 | 065 T z PD | Ob
7 [1CC023048I Metody optymalizacji proceséw. 2 K2Aic U02 30 60 2 1,4 T Z P S W
8 [1CC023049w Modelowanie proceséw 1 K2Aic_W03 15 60 2 0,65 T E S W
9 [ICC0230491 Modelowanie procesow. 3 K2Aic U04 45 90 3 2,1 T Z P S W
10 [1CC023050w Procesy biotechnologiczne 1 K2Aic W05 K2Aic W06 15 30 1 0,65 T Z S W
11 [1CC023050I1 Procesy biotechnologiczne. 2 K2Aic U06 K2Aic U07 K2Aic K04 30 60 2 1,4 T Z P S W
12 [1CC023051w Konstrukcja aparatury procesowej 1 K2Aic_ W01 15 60 2 0,65 T Y4 S W
13 |ICC023051p Konstrukcja aparatury procesowej. 2 K2Aic U03 30 60 2 1,5 T Z P S W
710111410 330 | 840 28 [15,25 T 2
kursy wybieralne
taczna liczba punktow ECTS 2
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kursigrupa kursow
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ godzin L godzin ECTS kursu/ | Sposéb
L.p. . Symbol efektu uczenia si¢ - ' X
grupy kursow symbolem GK) ) zaje¢ | Orupy | zaliczenia| og6lno- | o charakterze .
wilé| I |{p]s ZZU | CNPS |faczna BK | kursow uczelniany | praktycznym rodzaj | typ
1 Jezyk obey I (A1/A2) 3 K2Aic_U08 45 60 2 1,8 Y4 P KO | W
Razem 0of3({o0fo0]oO 45 60 2 18

Laczna liczba godzin

wlé¢|l Il [ p]s

Laczna liczba godzin
ZZU

Laczna liczba
godzin CNPS

Laczna liczba pkt.

ECTS

Liczba punktow
ECTS zajeé BK

713111410

375

900

30

17,05




semestr 3

kursy obowigzkowe

taczna liczba punktow ECTS 25
Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. | Forma .
a a a : . p Kurs/grupa kurséw
Lp Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ godzin godzin ECTS kursu/ | Sposéb
' grupy kurséw symbolem GK) ] zajeé | 9rupy | zaliczenia | ogélno- | o charakterze .
wilé| I |{p]s ZZU | CNPS |1aczna BK | kursow uczelniany | prakiycznym rodzaj | typ
1 |ICC023052w Krystalizacja 1 K2Aic_W01 15 30 1 0,65 T z S w
2 |Icc023052I Krystalizacja. 2 K2Aic U01 K2Aic K04 30 60 2 1,4 T z P S W
3 |ICC023053w  Dynamika systemow i sterowanie 1 K2Aic_W03 15 | 60 2 | 065 T z S | W
4 [1CC023053I Dynamika systemdw i sterowanie. 3 K2Aic U02 45 90 3 2,1 T Y4 P S W
5 |ICC023054w  |Symulacje proceséw metoda CFD 1 K2Aic_W03 15 | 60 2 | 065 T E S | W
6 [1CC0230541 Symulacje proceséw metodg CFD. 2 K2Aic U04 30 90 3 14 T Z P S W
7 |1CC023068w Inzynieria systemow procesowych 1 K2Aic_W03 15 60 2 0,65 T E S W
8 |ICC023068p Inzynieria systemdw procesowych. 2 K2Aic U02 30 90 3 15 T Z P S W
9 |ICC023069w Projektowanie instalacji przemystowych 1 K2Aic_W03 15 30 1 0,65 T Y4 S W
10 [ICC023069p Projektowanie instalacji przemystowych. 2 K2Aic U03 K2Aic U07 30 90 3 15 T Z P S W
11 [1CC023055w Zjawiska transportu w procesach chemicznych 2 K2Aic_W03 30 60 2 13 T E S W
12 |1CC023055p Zjawiska transportu w procesach chemicznych. 1 K2Aic U02 15 30 1 0,75 T Z P S W
Razem 710|l7]5]0 285 | 750 25 | 132 3
kursy wybieralne
faczna liczba punktéw ECTS 5
Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. | Forma .
X i . : : . Kurs/grupa kurséw
Lp Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursoéw (grupe kurséw oznaczy¢ godzin godzin ECTS kursu/ | Sposéb
™| grupy kurséw symbolem GK) . zaje¢ | Orupy | zaliczenia [ ogélno- | o charakterze ]
wilé| I |{p]s ZZU | CNPS |1aczna BK | kursow ot iy Bk caman rodzaj | typ
1 [CHC020002I Praca dyplomowa | 4 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_K07 K2Aic_K08 60 120 4 3 T z P K w
2 Jezyk obey I (B2+) 1 K2Aic_U08 K2Aic_U10 15 30 1 0,6 z P KO | W
Razem 0j1]l4]0]0 75 | 150 5 3,6

Laczna liczba godzin |Eaczna liczba godzin| — Laczna liczba Laczna liczba pkt. | Liczba punktéw
wilé| | p|s ZZU godzin CNPS ECTS ECTS zajg¢ BK
711(11{5]0 360 900 30 16,8




semestr 4

kursy obowigzkowe

taczna liczba punktow ECTS 8
Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. | Forma p
a a a : . p Kurs/grupa kurséw
Lp Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ godzin godzin ECTS kursu/ | Sposéb
| grupy kurséw symbolem GK) ] zaje¢ | Orupy | zaliczenia [ ogélno- | o charakterze i
wilé| I |{p]s ZZU | CNPS |1aczna BK | kursow uczelniany | prakiycznym rodzaj | typ
1 |ICC023070w Zarzadzanie projektami przemystowymi 1 K2Aic_W04 K2Aic_Wo07 K2Aic_K02 K2Aic_K03 15 60 2 0,65 T z KO | W
2 |1CC023070c Zarzadzanie projektami przemystowymi. 2 K2Aic U05 K2Aic U08 K2Aic K02 K2Aic K03 30 90 3 14 T Z P KO [ W
3 |ICC023057w Mikroinzynieria chemiczna 1 K2Aic_ W01 K2Aic_W06 15 30 1 0,65 T Y4 PD | Ob
4 [1CC023057p Mikroinzynieria chemiczna. 2 K2Aic U02 30 60 2 15 T z P S w
Razem 212|0]2]0 90 | 240 8 42 0
kursy wybieralne
taczna liczba punktow ECTS 22
Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia sig¢ Liczba Liczba pkt. | Forma Kurs/aruna Kursow
Lp Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow oznaczy¢ godzin godzin ECTS kursu/ | Sposéb grup
| grupy kurséw symbolem GK) ] zaje¢ | Orupy | zaliczenia [ ogélno- | o charakterze |
wil¢| 1 |p]|s ZZU | CNPS |faczna BK | kursow uczelniany | praktycznym rodzaj | typ
1 Kurs wybieralny 2 K2Aic_W06 30 60 2 1,3 T Z S W
2 |CHC020010 | |Praca dyplomowa Il 14 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_K07 K2Aic_KO08 210 | 300 10 8,5 T z P K w
3 [ICC023001s Sem. dyplomowe +praca magisterska +przyg. do egz. 1 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_KO01 K2Aic_K05 15 | 300 10 5 T z P K w
dypl. K2Aic K06
Razem 2014|012 255 | 660 22 | 148
Laczna liczba godzin |Eaczna liczba godzin|  Laczna liczba Laczna liczba pkt. | Liczba punktéw
wilé| | p|s ZZU godzin CNPS ECTS ECTS zajg¢ BK
4121141211 345 900 30 19
Lista kursow specjalnosciowych wybieralnych
L.p.| Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia sig Liczba Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kurséw
grupy kursow symbolem GK) wilé| I |{p]s ZZU | CNPS |taczna| zaje¢ | kursu/ | zaliczenia | ogélno- | o charakterze |rodzaj | typ
BK grupy uczelniany | praktycznym
1 [ICC020012w Zarzadzanie firma w oparciu o relacyjne bazy danych 2 K2Aic W06 30 60 2 1,3 T Z S W
2 |1CC020013w Procesy petrochemiczne 2 K2Aic W06 30 60 2 13 T Y4 S W
3 |1CC020015w Materialy wykorzystywane w procesach i operacjach 2 K2Aic_W06 30 60 2 13 T z S W
chemicznych
4 |ICC020014w  |Termodynamika statystyczna w modelowaniu 2 K2Aic_W06 30 60 2 1,3 T z S w
molekularnym




2. Zestaw egzaminow w ukladzie semestralnym

Nazwy kursow/ grup kursow konczacych si¢

Kod kursu/grupy kurséw . Semestr
egzaminem
ELR021225w Metody badan materiatow 1
TCCO15003w Podst_awovx_/e procesy jednostkowe w technologii 1
chemicznej
1CC023018w Aparatura procesowa 2
ICC023049w Modelowanie proceséw 2
1CC023068w Inzynieria systemow procesowych 3
ICC023055w Zjawiska transportu w procesach chemicznych 3
1CC023054w Symulacje proceséw metodg CFD 3




3. Liczby dopuszczalnego deficytu punkiéw ECTS po poszczegdlnych semestrach

Semestr Dopuszczalny deficyt punktow ECTS po semestrze
1 15
2 15
3 15
4

Opinia wiasciwego organu Samorzadu Studenckiego
Samorzad studencki aprobuje Plan studiéw I stopnia na kierunku Inzynieria chemiczna i procesowa, na specjalnosci :

Projektowanie proceséw chemicznych




1)BK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow

2)Tradycyjna — T, zdalna — Z

3)Egzamin — E, zaliczenie na ocen¢ — Z. W grupie kursoéw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie form¢ kursu koncowego (w, c, 1, s, p)

4)Kurs/ grupa kursow Ogolnouczelniany — O
5)Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczbg punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

6)KO - ksztatcenia ogdlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy
7) W — wybieralny, Ob — obowiazkowy



Zal. nr 4 do ZW 13/2019

Zatacznik nr 3 do Programu studiow

PLAN STUDIOW

WYDZIAL: Chemiczny

KIERUNEK STUDIOW: Chemical and Process Engineering

POZIOM KSZTALCENIA: studia drugiego stopnia (4 sem. magisterskie)

FORMA STUDIOW: stacjonarna

PROFIL: ogolnoakademicki

SPECJALNOSC: Advanced Chemical Engineering and Nanotechnology
JEZYK PROWADZENIA STUDIOW: jezyk angielski

Obowigzuje od roku akademickiego 2019/2020 ze zmianami wprowadzonymi Uchwala nr 292/24/2020-2024 Senatu Politechniki Wroctawskiej z dnia
7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwaty nr 743/32/2016-2020 Senatu PWr z dnia 16 maja 2019 r.




Semestr uzupelniajacy na studiach 4-semestralnych

Sem. Specjalnosci w j. angielskim CH, CIM, ICH, TCH BT
Godz. 26h /30 ECTS /2E 26 h/30 ECTS/ 2E 26 h /30 ECTS / 2E
26 | Elective course | 2w(2 ECTS) Bezpieczenstwo techniczne Bezpieczefstwo pracy i ergonomia
1w+ 11 (1 +1ECTS) 1w (1 ECTS)
25 Ochrona $rodowiska
24 | Chemical informatics Recykling materiatow 2w (2 ECTS)
23 |21 (2ECTS) 2w (2 ECTS) Analiza ekonomiczna chemicznego
procesu technologicznego 1w (1 ECTS)
22 | Environment protection 2w (2 ECTS) Metody badan materiatow Podstawy bioinformatyki
21 2w (2 ECTS) 2l (2 ECTS)
20 Introduction to materials science and Pomiary w aparaturze procesowej Biotechnologia E
19 |engineering 2w (2 ECTS) 2w + 21 (2+ 2 ECTS) 2w (3 ECTS)
18 | Technical safety 1w (3 ECTS) Mikrobiologia przemystowa
17 | Technical drawing 2l (2 ECTS) 2w (2 ECTS)
16 Podstawy technologii chemicznej Separacje i oczyszczanie bioproduktow
15 | Recycling of materials 2w (2 ECTS) 2w +2p (3+2) ECTS 2w+2l
14 (3+2) ECTS
13 | Biotechnology with introduction to industrial
12 | microbiology Podstawowe procesy jednostkowe w Inzynieria bioreaktorow E
11 |2w+1p (2 +1ECTS) technologii chemicznej 2w+2|
2w (3 ECTS) (3+2) ECTS
10 | Fundamentals of chemical technology Materiatoznawstwo
9 | 2w+2p (2+2 ECTS) E |2w(2ECTS)
8 Technologie informacyjne B Inzynieria chemiczna
7 21 (2ECTS) 2c+2l
6 Measurements in chemical equipment Grafika inzynierska (2+2) ECTS
5 |1w+21(2+2ECTS) 21 (2ECTS)
4 Podstawy inzynierii chemicznej Podstawy inzynierii chemicznej
3| Introduction to chemical engineering E |2W+2e 2w (3 ECTS)
2 2w + 1c (2 + 2 ETCS) (3 +3ETCS) Grafika inzynierska
1 21 (2 ECTS)
Sem. complementary engineering / uzupelniajacy inzynierski

Elective course I: CHC020054w Fundamentals of physical chemistry 2w 2ECTS,
BTC020013w Molecular biology 2w 2ECTS
TCC020024w Basic unit processes in chemical technology 2w 2ECTS

2019/2020



POWER ZPR PWr  2019/2020

STUDIA 11 STOPNIA, MAGISTERSKIE (3 sem) Kursy wybieralne - Electives: Microwaves and other advanced thermal technologies in
KIERUNEK: INZYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA g\tljt(‘;“gg;g‘;rm"dy”ami“ in molecular modeling - chemical engineering - 2w QECTS) =
. ‘. ; ; ; W utions i i i i
Specjalnosé: Advanced Chemical Engineering Materials used in chemical unit operation 200 (2 ECTpS) g g
and Nanotechnology (prof. A. Trusek) 2w (2 ECTS)
SPECJALNOSC W NOWEJ FORMULE
Sem. | 1 111
Godz. 25h /30 ECTS / 2E 23h /30 ECTS/2E 24h /30 ECTS
26
25 Trends in chemical engineering development
1s (LECTS)
24 Nanoengineering — fundamentals and applications Foreign language |
1c (1 ECTS)
23 4w (6ECTS) E | Chemical processes project designed and Electives Il
22 2l (2ECTYS) management 2w (2ECTS)
21 | 2s(2ECTS) Project Management
2p (2ECTS) 3w (5ECTS) E |1w(2ECTS)
20 11 (2ECTS) Business Management
19 2s (2ECTS) 2w (3ECTS)
18 4p (4ECTY) Foreign language 11
17 3c (2 ECTS) ECTS
16
15 Graduate laboratory 11
14 Chemical Processes Equipment and Methods 141 (10 ECTS)
13 Heterogeneous processes in chemical, food and
12 4w (6ECTS) E | pharmaceutical industry
11 41 (4ECTS)
10 1s (1ECTS) 4w (6ECTYS) E
9 4p (4ECTS) 31 (3ECTYS)
) 1c (2ECTS)
7 1p (2ECTS)
6
5
4 Graduate laboratory |
3 41 (4 ECTS)
2
1 Statistical analysis of experimental data Graduate seminar + master thesis
1w (2 ECTS) 1s (10 ECTS)
Sem. | 11 11

Dopuszczalny deficyt punktow ECTS po kazdym semestrze: 15 ECTS



1. Zestaw kursow i grup kurséw obowiazkowych i wybieralnych w ukladzie semestralnym

semestr 1 |kursy obowiazkowe
taczna liczba punktow ECTS 28
. . . . . Liczba pkt. -
Tygodniowa liczba godzin Liczba godzin ECTS Forma Kurs/grupa kurséw
Lp. Kod kurSLlII grupy | Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kursow oznaczy¢ symbolem SynbleRiin e kursu/ SPOS()b_
kurséw GK) - grupy zaliczenia 6Ino- el
Il p|s ZzU | CNPS | taczna | Y5 | kursow 0goino- ) o charakterze | o 0: | typ
wie BK uczelniany | praktycznym
1 |TCC024022w |Technical safety 1 K2Aic W13 15 90 3 0,65 T Z P K Ob
2 |0SC024005w |Environment protection 2 K2Aic U15 K2Aic U16 30 60 2 1,3 T Z P K Ob
3 [IMC024010w |Introduction to materials science and engineering 2 K2Aic W15 30 60 2 1,3 T Z P K Ob
4 |ICR024024w |Measurement in chemical equipment 1 K2Aic W09 15 60 2 0,65 T Z P K Ob
5 |ICR024024 1 |Measurement in chemical equipment. 2 K2Aic_U15 K2Aic_U17 K2Aic_U16 30 | 60 2 1,4 T z P K | ob
6 |BTC024022w Bl_otechnology with introduction to industrial 2 K2Aic_W09 K2Aic_W14 K2Aic_W11 K2Aic_W17 30 60 2 13 T z P K Ob
microbiology
7 |BTC024022p Bl_otech_nology with introduction to industrial 1 K2Aic_U12 15 30 1 0.75 T 7 P K | ob
microbiology.
8 |TCC024023w |Fundamentals of chemical technology 2 K2Aic W15 30 60 2 13 T E P K Ob
9 |TCC024023p |Fundamentals of chemical technology. 2 K2Aic_U11 K2Aic_U15 K2Aic_U18 K2Aic_U13 30 | 60 2 15 T z P K | ob
10 [INC024009 | |Chemical informatics 2 K2Aic_U13 K2Aic_U14 K2Aic_U15 30 60 2 14 T VA P K Ob
11 |GFC024002 | |Technical drawing 2 K2Aic U12 K2Aic U13 30 60 2 14 T Z P K | Ob
12 [ICC024025wW |Introduction to chemical engineering 2 K2Aic_W08 K2Aic_W10 K2Aic_W11 K2Aic_W12 30 60 2 1,3 T E P K Ob.
13 [ICC024025c |Introduction to chemical engineering. 1 K2Aic U1l 15 60 2 0,7 T Z P K Ob
14 |IMC024009w |Recycling of materials 2 K2Aic W16 30 60 2 1,3 T Z P K Ob
Razem 1411161310 360 | 840 28 |16,25 2
kursy wybieralne
taczna liczba punktow ECTS 2
T . 5 . . . Liczba pkt. Forma ,
ygodniowa liczba godzin Liczba godzin , Kurs/grupa kursow
Kod kursu/ grupy| Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow oznaczy¢ symbolem o ECTS kursu/ | Sposéb
L.p. e Symbol efektu uczenia sig¢ . .
kurséw GK) s || g zajec | 9rupy | zaliczenia [ qo6ng. [ o charakterze -
w | ¢ p S ZZU | CNPS | taczna BK Kurséw uczelniany | praktycznym rodzaj | typ
1 Elective course | K2Aic W06 30 60 2 1,3 T Z K W
CHC020054w |Fundamentals of physical chemistry
BTC020013w_|Molecular biology
TCC020024w |[Basic unit processes in chemical technology K W
Razem 2]0]0jJ0]oO0 30 60 2 1.3
Laczna liczba godzin Laczna liczba godzin Laczna liczba godzin Laczna liczba pkt. | Liczba punktéw ECTS
wlel[t]p]s ZzU CNPS ECTS zaje¢ BK
161116 ]3]0 390 900 30 17,55




semestr 2

kursy obowiazkowe
taczna liczba punktow ECTS

30

Tygodniowa liczba godzin Liczba godzin Riczhalnk: Forma ) Kurs/grupa kursow
Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ symbolem L ECTS kursu/ Sposéb
L.p. 2 Symbol efektu uczenia si¢ . .
kursow GK) zajec | 9rupy | zaliczenia | 504100 g charakterze )
w | ¢ | s ZZU | CNPS | faczna BK Kurséw uczelniany!| || praktyeznym rodzaj | typ
1 |ICC024032s |Trends in chemical engineering development 1 K2Aic_W06 K2Aic_U09 K2Aic_K06 15 30 1 0,7 T z P S W
2 |ICC024033w |Nanoengineering-fundamentals and applications 4 K2Aic_W01 K2Aic_W03 K2Aic_W06 60 | 180 6 2,6 T E PD | Ob
3 |ICC024033]  |Nanoengineering-fundamentals and applications. 2 K2Aic_U02 K2Aic_U04 K2Aic_Uo07 K2Aic_Ko04 30 | 60 2 1,4 T z S | w
4 [ICC024033s  |Nanoengineering-fundamentals and applications. .. 2 K2Aic_U02 K2Aic_U04 K2Aic_U07 30 | 60 2 14 T z S | w
5 |ICC024033p |Nanoengineering-fundamentals and applications.. K2Aic_U02 K2Aic_U04 K2Aic_U07 30 | 60 2 15 T z S | w
6 [ICC024034w |Chemical Processes Equipment and Methods 4 K2Aic_W01 60 | 180 6 2,6 T E S | w
7 |ICC0240341  |Chemical Processes Equipment and Methods. 4 K2Aic_U01 K2Aic_K04 60 | 120 4 2,8 T z P S | w
8 |ICC024034s |Chemical Processes Equipment and Methods. .. 1 K2Aic U01 15 30 1 0,7 T Z P S W
9 |ICC024034p  |Chemical Processes Equipment and Methods.. K2Aic_U01 60 | 120 4 3 T z P S | w
10 |MAC024022w |Statistical analysis of experimental data 1 K2Aic_W03 15 | 60 2 | 065 T z PD | Ob
Razem 9]10][ 6 4 375 | 900 30 | 17,35 2
kursy wybieralne
taczna liczba punktow ECTS 0
Tygodniowa liczba godzin Liczba godzin | -ER2PKE Forma ) Kurs/grupa kurséw
Lp, | Kod kursu/ grupy| Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow oznaczyé symbolem o ECTS kursu/ Sposob
.p. e Symbol efektu uczenia si¢ i q
kursow GK) I zajec | 9rupy | zaliczenia [ qo6no. [ o charakterze -
w | ¢ S ZZU | CNPS | taczna BK Kurséw uczelniany | praktycznym rodzaj | typ
Razem 0j]0]0 0 0 0 0 0
Laczna liczba godzin Laczna liczba godzin Laczna liczba godzin Laczna liczba pkt. | Liczba punktéw ECTS
wel s zz7U CNPS ECTS Zzajeé BK
9(01]6 4 375 900 30 17,35




semestr 3

kursy obowiazkowe
taczna liczba punktow ECTS

26

Tygodniowa liczba godzin Liczba godzin Riczhalnk: Forma ) Kurs/grupa kursow
Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ symbolem L ECTS kursu/ Sposoéb
L.p. 2 Symbol efektu uczenia si¢ . .
kurséw GK) ] zajec | 9TUPY | zaliczenia [ oo6in0- [ charakterze )
w | ¢ | p s ZZU | CNPS | faczna BK Kurséw uczelniany!| || praktyeznym rodzaj | typ
1 |ICC024035w |Chemical processes project designed and management K2Aic_W02 K2Aic_W03 K2Aic_W04 K2Aic_WO07 45 | 150 5 1,95 T E S w
2 [ICC0240351 |Chemical processes project designed and management. 1 K2Aic U03 K2Aic U04 K2Aic U05 15 60 2 0,7 T Z P S W
3 |ICC024035s |Chemical processes project designed and 2 K2Aic_U03 K2Aic_U04 K2Aic_U05 30 60 2 14 T z P S W
management...
4 |ICC024035p |Chemical processes project designed and management.. 4 K2Aic U03 K2Aic U04 K2Aic U05 60 120 4 3 T Z P S W
5 |1ICC024036w |Heterogeneous processes in chemical,food and K2Aic_W03 K2Aic_W05 K2Aic_W06 S W
L 4 60 | 180 6 2,6 T E
pharmaceutical industry
1CC0240361 |Heterogeneous processes in chemical,food and K2Aic_U01 K2Aic_U02 K2Aic_U06 K2Aic_U07 P S w
6 L 3 45 90 3 2,1 T z
pharmaceutical industry..
7 |1CC024036¢c |Heterogeneous processes in chemical,food and K2Aic_U01 K2Aic_U02 K2Aic_U06 K2Aic_U07 P S W
L 1 15 60 2 0,7 T z
pharmaceutical industry.
1CC024036p |Heterogeneous processes in chemical,food and K2Aic_U01 K2Aic_U02 K2Aic_U06 K2Aic_U07 P S w
8 . 1 15 60 2 0,75 T z
pharmaceutical industry...
Razem 71114152 285 [ 780 26 13,2 2
kursy wybieralne
taczna liczba punktow ECTS 4
Tygodniowa liczba godzin Liczba godzin LA It Forma ) Kurs/grupa kurséw
L. |Kod kursu/ grupy| Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow oznaczy¢ symbolem o ECTS kursu/ Sposéb
.p. e Symbol efektu uczenia sig¢ . .
kurséw GK) s || g zajec | 9rupy | zaliczenia [ qo6no. [ o charakterze -
w | ¢ p S ZZU | CNPS | taczna BK Kurséw uczelniany | praktycznym rodzaj | typ
1 |CHCO030009 I |Graduate laboratory | 4 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_KO07 K2Aic_K08 60 120 4 3 T 7 P K W
Razem 0j0]l4]0]0 60 | 120 4 3
Laczna liczba godzin Laczna liczba godzin Laczna liczba godzin Laczna liczba pkt. | Liczba punktéw ECTS
wle|l 1| p]s zzu CNPS ECTS zajeé BK
7111852 345 900 30 16,2




semestr 4

kursy obowiazkowe

taczna liczba punktow ECTS 5
. . . . . Liczba pkt. Forma .
Tygodniowa liczba godzin Liczba godzin ) Kurs/grupa kurséw
Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ symbolem L ECTS kursu/ Sposéb
L.p. 2 Symbol efektu uczenia si¢ . .
kurséw GK) | zajec | 9TUPY | zaliczenia [ oo6in0- [ charakterze -
w | ¢ p S ZZU | CNPS | taczna BK Kursow uczelniany | praktycznym rodzaj | typ
1 |ICC024037w |Project management 1 K2Aic_Wo04 K2Aic_W07 K2Aic_K02 K2Aic_K03 15 60 2 0,65 T z KO | W
2 |ZMC024006w |Business management 2 K2Aic_W04 K2Aic_Wo07 K2Aic_K02 K2Aic_K03 30 90 3 1,3 T z KO | W
Razem 3/0[0][0]0O 45 150 5 1,95 0
kursy wybieralne
taczna liczba punktow ECTS 25
. . . N A Liczba pkt. Forma A
Tygodniowa liczba godzin Liczba godzin ; Kurs/grupa kurséw
Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow oznaczy¢ symbolem L ECTS kursu/ Spos6b
L.p. = Symbol efektu uczenia si¢ p a
kursow GK) I 0 | ez |l zajec | 9rupy | zaliczenia [ qo6no. [ o charakterze -
wie Ps aczna | gy | kurséw uczelniany | praktycznym | 0% e
1 Elective course Il K2Aic_W06 30 60 2 1,3 T Z S W
1CC020009w | Materials used in chemical unit operation S w
1CC020010w |Microwaves and other advanced thermal technologies in S w
chemical engineering
1CC020011w [New concepts and solutions in chemical engineering S w
1CC020008w |Statistical thermodynamics in molecular modeling S W
2 Foreign language | (B2+) 1 K2Aic_U08 K2Aic_U10 15 30 1 0,6 T Z 0O P KO | W
3 Foreign language 1l (A1/A2) 3 K2Aic U08 45 60 2 1,8 T Z [¢] P KO | W
4 |CHCO030008 I |Graduate laboratory Il 14 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_K07 K2Aic_K08 210 | 300 10 8,5 T z P K W
5 [ICC024001s |Graduate seminar + Master Thesis 1 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_K01 K2Aic_K05 15 | 300 10 5 T z P K W
K2Aic_K06
Razem 2(4114{0]1 315 | 750 25 17,2
Laczna liczba godzin Laczna liczba godzin Laczna liczba godzin Laczna liczba pkt. | Liczba punktéw ECTS
wlc| 1 ]p]s zzU CNPS ECTS zaje¢ BK
5[(4114{0]1 360 900 30 19,15




2. Zestaw egzaminow w ukladzie semestralnym

Nazwy kursow/ grup kursow konczacych sie

Kod kursu/grupy kursow egzaminem Semestr
TCC024023w Fundamentals of chemical technology 1
ICC024025w Introduction to chemical engineering 1
ICC024033w Nanoengineering-fundamentals and applications 2
ICC024034w Chemical Processes Equipment and Methods 2
ICC024035w Chemical processes project designed and management 3
1CC024036w Heterogeneous processes in chemical,food and 3

pharmaceutical industry




3. Liczby dopuszczalnego deficytu punktéw ECTS po poszczegdinych semestrach

Semestr Dopuszczalny deficyt punktéw ECTS po semestrze
1 15
2 15
3 15
4

Opinia wlasciwego organu Samorzadu Studenckiego
Samorzad studencki aprobuje Plan studiéw II stopnia na kierunku Inzynieria chemiczna i procesowa, na specjalnosci :

Advanced Chemical Engineering and Nanotechnology

Data Podpis Dziekana



1)BK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
2)Tradycyjna — T, zdalna — Z
3)Egzamin — E, zaliczenie na ocen¢ — Z. W grupie kursow po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, ¢, 1, s, p)

4)Kurs/ grupa kurséw Ogolnouczelniany — O
5)Kurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisaé liczb¢ punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6)KO - ksztatcenia ogdlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy

7) W — wybieralny, Ob — obowigzkowy



Zal. nr 4 do ZW 13/2019
Zalacznik nr 3 do Programu studiow

PLAN STUDIOW

WYDZIAL.: Chemiczny

KIERUNEK STUDIOW: Inzynieria chemiczna i procesowa
POZIOM KSZTALCENIA': studia drugiego stopnia
FORMA STUDIOW: stacjonarna

PROFIL: ogbélnoakademicki / praktyezny *

SPECJALNOSC: Chemical Nanoengineering

JEZYK PROWADZENIA STUDIOW: angielski

Obowiazuje od roku akademickiego 2019/2020
ze zmianami wprowadzonymi Uchwatg nr 292/24/2020-2024 Senatu Politechniki Wroctawskiej
z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwaty nr 743/32/2016-2020 Senatu PWr z dnia 16 maja 2019 r.



Struktura planu studiow (opcjonalnie)
1) w uktadzie punktowym
(miejsce na zamieszczenie schematu planu studiow)

2) w uktadzie godzinowym
(miejsce na zamieszczenie schematu planu studiow)



STUDIA 11 STOPNIA, MAGISTERSKIE (4 sem)

KIERUNEK: INZYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
Specjalno$¢: Chemical Nano-Engineering ( studia miedzynarodowe)

2019/2020

Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4
Marseille  270h/30ECTS/3E Wroclaw 435h/30ECTS/2E Rome 270h/30ECTS/2E 360h/30ECTS
(Nano-Chemistry) (Nano-Engineering) (Nano-Applications)
Structure and Crystallography of Solids Nanoscale Synthesis Methods E
2w+1c 24w+15c+61
(2+1 ECTS) (2+2+1 ECTS)
Synthesis and Fabrication of Nano-engineering Macromolecular and Supramolecular Chemistry/
Systems E 24w+15c+61
2w+1c (2+2+1 ECTS) Master Thesis
(2+1 ECTS)
Nano-Electrochemistry E | Fabrication of Smart Polymers Characterization of Nano-Engineering Systems E
15w+9c+3lI 2w+1l 24w+18c+12|
(1+1+1 ECTS) (2+1 ECTS) (2+2+2 ECTS)
Solid State Chemistry and Nano-materials E | Engineering of Nano-machines Nanoscale Energy Technology, Nano-sensors and
36w+21c+6l 1w+1s Micro-fluidics
(3+3+1 ECTS) (1+1 ECTS) 24w+15c+61
(2+2+1 ECTS)
Organic Chemistry of Nano-materials Bio-photonics E NMR of Nanosystems
15w+9c+3l 1w+1s 24w+15c+61
(1+1+1 ECTS) (1+1 ECTS) (2+2+1 ECTS)
(Option A: Chemistry)
Basic Quantum Chemistry Modeling Biomaterials-Biomedical Devices Structural and Functional Properties of Biopolymers
15w+9c+3l 1w+1s 24w+15c+6l
(1+1+1 ECTS) (2+1 ECTS) (2+2+1 ECTS)
(Option A: Chemistry)
Computational Modeling of Nano-Systems Nanostructures in Industrial and Numerical Nanoscale Structural transformations and Kinetics
24w+21c+18I Applications 24w+15w+6l
(3+2+2 ECTS) 2w+2c+2s (2+2+1 ECTYS)
(2+2+1 ECTS) (Option B: Modeling)
Thermodynamics of Materials- Interactions Economics and Management Probability and Statistical Methods for Modelling
and Surface Forces E | 2w+2c Engineers
15w+9c+ 3l (3+2 ECTS) 24w+15¢+61
(1+1+1 ECTS) (2+2+1 ECTS)
(Option B: Modeling)
Nano-engineering Seminar + Project Nano-engineering Seminar + Project Nano-engineering Seminar + Project
18 ¢ (2 ECTS) 25 (2ECTS) 18p (2 ECTS)
Language Language Language
18c (2 ECTS) 2c (2 ECTS) 18c (2 ECTS)
Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4




1. Zestaw kurséw / grup kursé6w obowigzkowych i wybieralnych w ukladzie semestralnym

2Tradycyjna— T, zdalna— Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisaé w nawiasie forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)

“Kurs/ grupa kurséw Ogoélnouczelniany — O
SKurs/ grupa kursoéw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisaé liczbg punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

6 KO — ksztatcenia og6lnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy

W — wybieralny, Ob — obowigzkowy

Semestr 1
Kursy/grupy kurséw obowiazkowe liczba punktéw ECTS 28
Iicczageli(%\gclit;in Liczba godzin kaE.ICEZg?I'S g?krlr:: Spos- Kurs/grupa kursow
Kod . i sob
Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow Symbol efektu su/ . )
Lp. kursu/ oznaczy¢ symbolem GK) uczenia si jeé grupy 2ali- | ogolno
grupy kursow A sym w ¢ | ¢ ZZU | CNPS | faczna | A% Y| czeni | yczel | Chavakterze rodzaj® | typ’
BK kursd a . praktyczny
W niany* e
1. | 1ICC025011w Nano-Electrochemistry 15 K2Aic_W03 15 30 1 0,65 E S Ob
2. | 1CC025011c Nano-Electrochemistry 9 K2Aic_Uo07 9 30 1 0,42 z P S Ob
3. | ICC0250111 Nano-Electrochemistry 3 K2Aic_U07 3 30 1 0.14 z P S Ob
K2Aic_Ko04 '
4. | 1CC025012w Solid State Chemistry and Nanomaterials 36 K2Aic_ W01 36 90 3 1,56 E S Ob
5. | 1CC025012¢c Solid State Chemistry and Nanomaterials 21 K2Aic_U01 21 90 3 0.98 z P S Ob
K2Aic_U04 '
6. | 1ICC0250121 Solid State Chemistry and Nanomaterials 6 K2Aic_U01 6 30 1 0.28 z P S Ob
K2Aic_U04 '
7. | 1CC025013w Organic chemistry of Nanomaterials 15 K2Aic_ W01 15 30 1 0,65 Z S Ob
8. | 1CC025013c Organic chemistry of Nanomaterials 9 K2Aic_U01 9 30 1 0.42 z P S Ob
K2Aic_U02 '
9. | I1CC025013I Organic chemistry of Nanomaterials 3 K2Aic_U01 3 30 1 z P S Ob
K2Aic_U02 0,14
K2Aic_Ko04
10. | 1CC025014w Basic Quantum Chemistry Modelling 15 K2Aic_ W03 15 30 1 0,65 Z S Ob
11. | 1CC025014c Basic Quantum Chemistry Modelling 9 K2Aic_U04 9 30 1 0,45 z P S Ob
12.| 1CC025014I Basic Quantum Chemistry Modelling 3 K2Aic_U04 3 30 1 0,14 Z P S Ob
13. | 1CC025015w Computational Modelling of Nano-Systems 24 K2Aic_W03 24 90 3 1,04 Z S Ob
14. | 1CC025015¢ Computational Modelling of Nano-Systems 21 K2Aic_U04 21 60 2 0,98 z P S Ob
15. | 1CC025015I Computational Modelling of Nano-Systems 18 K2Aic_U04 18 60 2 0,84 Z P S Ob
16. | 1CC025016w Thermodynamics of Materials-Interactions 15 K2Aic_Wo01 15 30 1 0.65 E S Ob
and Surface Forces '
17. | 1CC025016¢c Thermodynamics of Materials-Interactions 9 K2Aic_U02 9 30 1 0.42 z P S Ob
and Surface Forces '
18. | 1CC025016l1 Thermodynamics of Materials-Interactions 3 K2Aic_U02 3 30 1 0.14 z P S Ob
and Surface Forces '
19. | 1CC025009¢c Nano-engineering Seminar + Project 18 K2Aic_U08 18 60 2 0,84 z P S Ob
K2Aic_U09
K2Aic_KO01
K2Aic_K06
Razem 120 | 96 | 36 252 840 28 11,39 3
IBK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentéw 3




Kursy wybieralne 18 godzin w semestrze, 2 punkty ECTS

Liczba

Kod Calkowita Liczba Forma2 | % Kurs/grupa kursow
. . - orma 3
kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kurséw liczba godzm _ Symbol godzm pkt. ECTS kursu/ s6b
L.p. I kierunk. efektu zali- | ogolno harakt
grupy oznaczy¢ symbolem GK) ksztal-cenia zajeé | Qrupy - g 0 charakt.
Kursow wl ¢ |1 |p ZZU | CNPS | dgczna | gyt | fursow | SN | uczel | prakyc rodzaj® | typ’
niany’ cznym
1. CHCO025001c | Language (English) C2 18 K2Aic_U08 18 60 2 0,84 z P KO W
K2Aic_U10
Razem 18 18 60 2 0,84
Razem w semestrze
Laczna Laczna Laczna . .
L liczba eodzi liczba liczba liczba LICEZé’.?_SI?un!m,)W
aczna ficzba godzin godzin godzin punktéw BKZIaNC
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p S
120 114 36 270 900 30 12,23
IBK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentéw 4

2Tradycyjna— T, zdalna— Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisaé w nawiasie forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
“Kurs/ grupa kurséw Ogoélnouczelniany — O

SKurs/ grupa kursoéw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisaé liczbg punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6 KO — ksztatcenia og6lnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy

W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




Semestr 2

Kursy/grupy kurséw obowiazkowe

liczba punktow ECTS 28

Calkowita

Liczba

. . ) ,
Kod Nazwa kursu/grupy kursdéw (grupe liczba godzin S_ymbol Liczba godzin pkt. ECTS Forma SPO; Kurs/grupa kursow
Lp. Kursu/ KUrsow kierunk. kursu/ s6b A —
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) & | efektu k_sztal- zajec grupy Za“f osomo | 0 charet i6 7
w ¢ p S cenia y/AV) CNPS faczna BK! kursow | czenia -u_czel- prakty- rodzaj typ
niany* cznym®
1. | 1CC025001w | Structure and Crystallography of solids 30 K2Aic_Wo01 30 60 2 13 z S Ob
2. | 1CC025001c Structure and Crystallography of solids 15 K2Aic_U02 15 30 1 0,7 z P S Ob
3. | ICC025002w | Synthesis and Fabrication of Nano- 30 K2Aic_Wo01 30 60 2 13 E S Ob
engineering Systems '
4. | 1CC025002c Synthesis and Fabrication of Nano- 15 K2Aic_U02 15 30 1 07 z P S Ob
engineering Systems '
5. | 1CC025003w | Fabrication of Smart Polymers 30 K2Aic_Wo01 30 60 2 13 z S Ob
K2Aic_W06 '
6. | 1CC025003I Fabrication of Smart Polymers 15 K2Aic_U01 15 30 1 z P S Ob
K2Aic_U06 07
K2Aic_U07
7. | 1CC025004w | Engineering of Nano-machines 15 K2Aic_W01 15 30 1 0,65 z S Ob
8. | 1CC025004s Engineering of Nano-machines 15 K2Aic_U04 15 30 1 z P S Ob
K2Aic_U05 0,7
K2Aic_K01
9. | ICC025005w | Bio-photonics 15 K2Aic W01 15 30 1 0,65 E S Ob
10. | 1CC025005s Bio-photonics 15 K2Aic_U05 15 30 1 07 z P S Ob
K2Aic_U07 '
11. | ICC025006w | Biomaterials-Biomedical Devices 15 K2Aic W01 15 60 2 0,65 Z S Ob
12. | 1CC025006s Biomaterials-Biomedical Devices 15 K2Aic_U06 15 30 1 0,7 z P S Ob
13. | ICC025007w | Nanostructures in Industrial and 30 K2Aic_W03 30 60 2 13 z S Ob
Numerical Applications K2Aic_W06 '
14. | 1CC025007c Nanostructures in Industrial and 30 K2Aic_U03 30 60 2 14 z P S Ob
Numerical Applications '
15. | 1CC025007s Nanostructures in Industrial and 30 K2Aic_U03 30 30 1 14 z P S Ob
Numerical Applications '
16. | ICC025008w | Economics and Management 30 K2Aic_Wo04 30 90 3 1,3 z KO w
K2Aic_W07
K2Aic_Ko02
K2Aic_KO03
17. | 1CC025008¢c Economics and Management 30 K2Aic_U03 30 60 2 1,4 z P KO W
K2Aic_Ko02
K2Aic_KO03
18. | 1CC025009s Nano-engineering Seminar + Project 30 K2Aic_U08 30 60 2 1,4 z P S Ob
K2Aic_U09
K2Aic_KO01
K2Aic_K06
Razem 195 90 15 105 405 840 28 18,25

IBK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentéw
2Tradycyjna— T, zdalna— Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisaé w nawiasie forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
“Kurs/ grupa kurséw Ogoélnouczelniany — O
SKurs/ grupa kursoéw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisaé liczbg punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

6 KO — ksztatcenia og6lnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy

W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




Kursy wybieralne 30 godzin w semestrze, 2 punkty ECTS
Kod Catkowita Svmbol Liczba Liczba corma | Spo Kurs/grupa kurséw
. . ymbo . orma -
L kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow liczba godzin kierunk. godzin pkt. ECTS kursu/ s6b° _
-P- grupy oznaczy¢ symbolem GK) efektu ksztat- zajeé grupy zali- ogllno | o charakt.
kursow wil ¢ |l|p]|s cenia y#4V) CNPS | taczna BK! kurséw | czenia | -uczel- Prath‘S rodzaj® typ’
niany4 cznym
1. | JzL100921c | Language(English) C2 30 K2Aic_U08 30 60 2 1,4 z P KO W
K2Aic_U10
Razem 30 30 60 2 15
Razem w semestrze:
Laczna Laczna Laczna . .
. . liczba liczba liczba Liczba punktf)w
Laczna liczba godzin - - . ECTS zajec
godzin godzin punktow BK!
ZzZU CNPS ECTS
w ¢ | s
195 120 15 105 435 900 30 19,65
IBK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentéw 6

2Tradycyjna— T, zdalna— Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisaé w nawiasie forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)

“Kurs/ grupa kurséw Ogoélnouczelniany — O

SKurs/ grupa kursoéw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisaé liczbg punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6 KO — ksztatcenia og6lnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy
W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




Semestr 3

Kursy/grupy kurséw obowigzkowe

liczba punktow ECTS 23

Kod _Calkow1ta_ Symbol Llczl:_)a Liczba o Spo- Kurs/grupa Kursow
L kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow liczba godzin kierunk. godzin pkt. ECTS | Formatkurs | g3
P grupy oznaczy¢ symbolem GK) efektu ksztat- zajec li(/ grupy zali- ogolno- 0 charakt.
kurséw w| ¢ | ]p cenia ZZU | CNPS | fgczna | oo Ursow czenia ﬁC;:;A prakty. rodzaj® | typ’
i cznym
1. | ICC025021w | Nanoscale Synthesis Methods 24 K2Aic_ W01 24 60 2 1,04 E S Ob
2. | 1CC025021c Nanoscale Synthesis Methods 15 K2Aic_U01 15 60 2 0,7 Y4 P S Ob
3. | 1CC025021l1 Nanoscale Synthesis Methods 6 K2Aic_U01 6 30 1 0,28 Y4 P S Ob
4. | 1CC025022w | Macromolecular and Supramolecular Chemistry 24 K2Aic_W01 24 60 2 1,04 Y4 S Ob
5. | 1CC025022¢c Macromolecular and Supramolecular Chemistry 15 K2Aic_U07 15 60 2 0,7 Y4 P S Ob
6. | 1CC0250221 Macromolecular and Supramolecular Chemistry 6 K2Aic_U07 6 30 1 z P S Ob
K2Aic_Ko04 0,28
7. | 1CC025023w | Characterization of Nano-engineering Systems 24 K2aic_ W02 24 60 2 1,04 E S Ob
8. | 1CC025023c Characterization of Nano-engineering Systems 18 K2Aic_U03 18 60 2 0,84 Y4 P S Ob
9. | 1CC025023I Characterization of Nano-engineering Systems 12 K2Aic_U03 12 60 2 4 P S Ob
K2Aic K04 0,56
10. | ICC025024w | Nanoscale Energy Technology,Nano-sensors and | 24 K2Aic_W01 24 60 2 1.04 z S Ob
Microfluidics K2Aic_W05 '
11. | 1CC025024c Nanoscale Energy Technology,Nano-sensors and 15 K2Aic_Uo04 15 60 2 07 z P S Ob
Microfluidics K2Aic_U06 '
12. | 1CC0250241 Nanoscale Energy Technology,Nano-sensors and 6 K2Aic_U04 6 30 1 z P S Ob
Microfluidics K2Aic_U06 0,28
K2Aic_K04
13. | 1CC025009p Nano-engineering Seminar + Project 18 K2Aic_U08 18 60 2 0,9 z P S Ob
K2Aic_U09
K2Aic_K01
K2Aic_K06
Razem 96 | 63 | 30 | 18 207 690 23 9,4 2
IBK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentéw 7

2Tradycyjna— T, zdalna— Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisaé w nawiasie forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
“Kurs/ grupa kurséw Ogoélnouczelniany — O
SKurs/ grupa kursoéw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisaé liczbg punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

6 KO — ksztatcenia og6lnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy

W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




Grupy kurséw wybieralnych 45 godzin w semestrze, S punktow ECTS

Calkowita Liczba Liczba Kurs/ Kursé
Kod liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma? | Spo- UIS/ETUpa KUIsow
L kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow _ oymbo kursu/ s6b°
P. I kierunk. efektu _ - ogdlno- 0
grupy oznaczy¢ symbolem GK) Ksztal-cenia zajeé grupy zali- g charakt. 6 7
kursdéw w ¢ hp ZZU | CNPS | faczna BK! kurséw | czenia uczel; prakty- | fodzaj typ
niany’ cznym®
1. MODUL: Option A Chemistry( do wyboru) 24 1 15 | 6 45 150 5 2,02
ICC025025w | NMR of Nanosystems 24 K2Aic_W01 24 60 2 1.04 4 S W
K2Aic_W05 '
1CC025025¢ NMR of Nanosystems 15 K2Aic_U06 15 60 2 0,7 Z P S w
1CC025025I NMR of Nanosystems 6 K2Aic_U06 6 30 1 z P S w
K2Aic_U08 0,28
K2Aic K04
ICC025026w | Structural and Function Properties of Biopolymers 24 K2Aic_Wo01 24 60 2 104 z S
K2Aic_W05 '
1CC025026¢ Structural and Function Properties of Biopolymers 15 K2Aic_U07 15 60 2 0,7 Z P S W
1CC0250261 Structural and Function Properties of Biopolymers 6 K2Aic_U07 6 30 1 z P S W
K2Aic_U08 0,28
K2Aic K04
2. MODUL: Option B Modelling( do wyboru) 24 | 15 | 6 45 150 5 2,02
ICC025027w | Nanoscale Structural Transformations and Kinetics | 24 K2Aic_ W03 24 60 2 1,04 Z S W
1CC025027¢ Nanoscale Structural Transformations and Kinetics 15 K2Aic_U06 15 60 2 0,7 Z P S W
1CC0250271 Nanoscale Structural Transformations and Kinetics 6 K2Aic_U02 6 30 1 028 Z P S W
K2Aic_U06 '
ICC025028w | Probability and Statistical Methods for Modelling 24 K2Aic_W03 24 60 2 104 z S W
Engineers '
1CC025028c Probability and Statistical Methods for Modelling 15 K2Aic_U02 15 60 2 07 z P S w
Engineers '
1CC0250281 Probability and Statistical Methods for Modelling 6 K2Aic_U02 6 30 1 028 z P S w
Engineers K2Aic_U04 '
Razem 24 | 15 | 6 45 150 5 2,02
IBK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentéw 8

2Tradycyjna— T, zdalna— Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisaé w nawiasie forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)

“Kurs/ grupa kurséw Ogoélnouczelniany — O

SKurs/ grupa kursoéw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisaé liczbg punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

6 KO — ksztatcenia og6lnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy

W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




Kursy wybieralne 18 godzin w semestrze, 2 punkty ECTS
; Catkowita Liczba Liczba , Kurs/erupa kursow
, . i i Symbol i . .
Ko liczba godzin y odzin kt. ECTS | Forma® | SPO- Erip
L kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow Kierunk. efekiu kursu/ s6b - 5
-P- grupy oznaczy¢ symbolem GK) ksztal-cenia zajec grupy zali- °g°1n|°’ charakt, " ;
kursow w ¢ Ip ZZU | CNPS taczna BK! kurséw | czenia u_cze ; prakty- | rodzaj typ
niany cznym®
1. | CHC025003c | Language(English) C2 18 K2Aic_U08 18 60 2 0,84 z P KO W
K2Aic_U10
Razem 18 18 60 2 0,84
Razem w semestrze:
Laczna Laczna Laczna
Laczna liczba eodzin liczba liczba liczba Liczba punktow
4 g godzin godzin punktow ECTS zaje¢ BK?
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p S
120 96 | 36 18 270 900 30 12,26
IBK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentéw 9

2Tradycyjna— T, zdalna— Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisaé w nawiasie forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
“Kurs/ grupa kurséw Ogoélnouczelniany — O
SKurs/ grupa kursoéw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisaé liczbg punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

6 KO — ksztatcenia og6lnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy

W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




Semestr 4

Kursy/grupy kurséw obowiazkowe liczba punktow ECTS .......
; Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/eruna kurséw
Ko , , liczba godzin | Symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | SPo- grup

kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow efektu kursu/ sob " o

grupy oznaczy¢ symbolem GK) ) uczenia zaje¢ | grupy zali- | 8OO | charakt. _

kursow wi ¢ | I |p|s sig ZZU | CNPS | faczna Bffl kursow | czenia U_CZEIA prakty- | rodzaj® | typ’

niany cznym®
Razem

Kursy wybieralne 360 godzin w semestrze, 30 punktow ECTS

Calkowita Liczba Liczba Kurs/ Kursé
Kod liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | Spo- UIS/ETLpa Kursow
kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow kierunk. . kursu/ $6b° 5
& . i 0lno-
grupy oznaczy¢ symbolem GK) ) efektu ksztat- zajec | grupy zali- 0go charakt. _
kursow w|¢ I pls cenia ZZU | CNPS | faczma | o1 | kursow | czenia uczel;l prakty- | rodzaj® typ’
niany’ cznym®
1CC0250301 Master Thesis 360 K2Aic_U09 360 900 30 18 4 P S W
K2Aic_K07
K2Aic_K08
K2Aic_KO01
K2Aic_KO05
Razem 360 360 900 30 18
Razem w semestrze:
Laczna Laczna Laczna
Laczna liczba eodzin liczba liczba liczba Liczba punktow
acz zba godz godzin godzin punktow ECTS zaje¢ BK*
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p s
360 360 900 30 18
IBK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentéw 10

2Tradycyjna— T, zdalna— Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisaé w nawiasie forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
“Kurs/ grupa kurséw Ogoélnouczelniany — O

SKurs/ grupa kursoéw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisaé liczbg punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6 KO — ksztatcenia og6lnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy

W — wybieralny, Ob — obowigzkowy



Zestaw egzaminow w ukladzie semestralnym

Kod kursu Nazwy kurséw konczacych si¢ egzaminem Semestr

1ICC025011w Nano-Electrochemistry
1CC025012w Solid State Chemistry and Nanomaterials 1
1CC025016w Thermodynamics of Materials-Interactions and Surface Forces
1CC025002w Synthesis and Fabrication of Nano-engineering Systems 2
1CC025005w Bio-photonics
1CC025021w Nanoscale Synthesis Methods 3
1CC025023w Characterization of Nano-engineering Systems

- - 4

3, Liczby dopuszczalnego deficytu punktow ECTS po poszczegolnych semestrach

IBK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentéw

2Tradycyjna— T, zdalna— Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisaé w nawiasie forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)

“Kurs/ grupa kurséw Ogoélnouczelniany — O

SKurs/ grupa kursoéw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisaé liczbg punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

Semestr Dopuszczalny
deficyt punktow ECTS
po semestrze

AWIN|F

6 KO — ksztatcenia og6lnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy

W — wybieralny, Ob — obowigzkowy

11



Opinia wlasciwego organu Samorzadu Studenckiego

Data Imie, nazwisko i podpis przedstawiciela studentdw

Data

'BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
*Tradycyjna— T, zdalna— Z

‘Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
*Kurs/ grupa kurséw Ogélnouczelniany — O

*Kurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisaé liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8 KO - ksztatcenia ogblnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy

7W —wybieralny, Ob — obowigzkowy

12



